
MEMS绝对压力传感器

2SMPB-02E
高精度·低消耗电流的小型MEMS绝对压力传感器

• 高精度地测量气压

• 内置低干扰的24bit ADC
• 基于I2C/SPI接口的数字控制/输出

• 在自动睡眠模式下实现低消耗电流

• 单独的补偿系数保存在OTP*中

(*One Time Programmable - ROM)

应用例

· 室内导航(地面检测)
· 汽车导航(高速公路和辅道的判别)
· 高度计

· 活动量计(检测台阶的升降)
· 生活日志

· 气象预测

目标设备示例

· 智能手机/平板电脑

· 手表型/扎带型/夹扣型/眼镜型等可穿戴设备

· GPS设备

· 计步器

包装信息

符合RoHS

请参阅24页的“请正确使用”。

构造 包装形式 型号 最小包装单位

LGA 9pin 压纹带卷盘 2SMPB-02E 3,500

2SMPB-02E
MEMS绝对压力传感器

请参阅第D-428页的“请正确使用”。
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 请य֯⭘オ气ԕཆ的㞀㲰ᙗ气փ。

绝对最ཝ仓ᇐٲ (25đ)

仓ᇐٲ

电气⢯ᙝ (ᰖ⢯ࡡ᤽ᇐᰬᶗԬѰTaω25đȽ VDDω1.8V)

⌘�� 7\p�ѝ䇠䘠的٬ᒦ䶎؍䇱٬。
�� к表অսѪሱ㻵ࡽ的⢩ᙗ。֯⭘ࡽˈ请㻵䝽㠣ӗ૱к䘋㹼࠶ݵ䇴ՠ。

亯目 内ᇯ 备⌞

压࣋的⿽㊫ 㔍ሩ压࣋

压࣋ӻ䍘 オ气


测量压࣋㤳ത 30N̚��0NPD

亯目 符号 Min. Typ. Max. 单位 备⌞

电Ⓚ电压 9GGPD[ ˉ ˉ ��0 9

ަᆳㄟᆀ电压 9PD[ �0�� ˉ 9RpUˇ0�� 9

ᴰབྷཆ࣐压࣋ PPD[ ˉ ˉ �00 NPD

ᆈ⑙度㤳ത؍ 7VWU ��0 ˉ �5 ć н㔃ߠǃнࠍ䵢

ۘᆈ⒯度㤳ത +VWU �0 ˉ 95 �5+ н㔃ߠǃнࠍ䵢

(S' +%0 9KEP ˉ ˉ �000 9 㔍ሩ٬

(S' 00 9PP ˉ ˉ �00 9 㔍ሩ٬

(S' &'0 9FGP ˉ ˉ 500 9 㔍ሩ٬

亯目 符号 Min. Typ. Max. 单位 备⌞

ᐕ֌电压㤳ത
9RpU ���� ��� 3�� 9 9''

9iR ���0 ��� 3�� 9 9'',2

ᐕ֌⑙度㤳ത 7RpU ��0 ˉ �5 ć

亯目 符号 ᶗԬ min Typ max 单位

平൷电⍱ ,Kp �+]�)RUFHG 0RGH
8OWUD +iJK AFFXUDF\ ˉ ���� ˉ PA 

ᐕ֌电⍱⎸㙇
,GGp 测量压࣋ᰦ ˉ ��0 �00 PA

,GGW 测量⑙度ᰦ ˉ ��0 5�0 PA

Ձⵐ⁑ᔿ电⍱⎸㙇 ,VOHHp ˉ ��� ��3 PA

压࣋测量㤳ത PRpU 30 ˉ ��0 NPD

㔍ሩ压࣋㋮度
PDEV� 30̚��0NPDǃ0̚�5ć ˉ �50 ˉ PD

PDEV� 30̚��0NPDǃ̄ �0̚0ć ˉ ��0 ˉ PD

⴨ሩ压࣋㋮度 PUHO� 8OWUD +iJK AFFXUDF\ ˉ �3�9 ˉ PD

UPVᒢᢠ PnRiV 8OWUD +iJK AFFXUDF\ ˉ ��3 ˉ PD

㔍ሩ⑙度㋮度 7DEV 90���0NPD, 0��0ć �� ˉ � ć

压࠶࣋䗘⦷ PUHV ˉ 0�0� ˉ PD

⑙度࠶䗘⦷ 7UHV ˉ 0�000� ˉ ć

电Ⓚ电压ਈ动 PpVUU �0��3NPD, 0��0ć, �����3��9
%DVH RG 9''   ���9 �9�� ˉ 9�� PD
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压࣋ӻ䍘 オ气


测量压࣋㤳ത 30N̚��0NPD
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ަᆳㄟᆀ电压 9PD[ �0�� ˉ 9RpUˇ0�� 9

ᴰབྷཆ࣐压࣋ PPD[ ˉ ˉ �00 NPD

ᆈ⑙度㤳ത؍ 7VWU ��0 ˉ �5 ć н㔃ߠǃнࠍ䵢

ۘᆈ⒯度㤳ത +VWU �0 ˉ 95 �5+ н㔃ߠǃнࠍ䵢

(S' +%0 9KEP ˉ ˉ �000 9 㔍ሩ٬
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(S' &'0 9FGP ˉ ˉ 500 9 㔍ሩ٬

亯目 符号 Min. Typ. Max. 单位 备⌞

ᐕ֌电压㤳ത
9RpU ���� ��� 3�� 9 9''

9iR ���0 ��� 3�� 9 9'',2

ᐕ֌⑙度㤳ത 7RpU ��0 ˉ �5 ć

亯目 符号 ᶗԬ min Typ max 单位

平൷电⍱ ,Kp �+]�)RUFHG 0RGH
8OWUD +iJK AFFXUDF\ ˉ ���� ˉ PA 

ᐕ֌电⍱⎸㙇
,GGp 测量压࣋ᰦ ˉ ��0 �00 PA

,GGW 测量⑙度ᰦ ˉ ��0 5�0 PA

Ձⵐ⁑ᔿ电⍱⎸㙇 ,VOHHp ˉ ��� ��3 PA

压࣋测量㤳ത PRpU 30 ˉ ��0 NPD

㔍ሩ压࣋㋮度
PDEV� 30̚��0NPDǃ0̚�5ć ˉ �50 ˉ PD

PDEV� 30̚��0NPDǃ̄ �0̚0ć ˉ ��0 ˉ PD

⴨ሩ压࣋㋮度 PUHO� 8OWUD +iJK AFFXUDF\ ˉ �3�9 ˉ PD

UPVᒢᢠ PnRiV 8OWUD +iJK AFFXUDF\ ˉ ��3 ˉ PD

㔍ሩ⑙度㋮度 7DEV 90���0NPD, 0��0ć �� ˉ � ć

压࠶࣋䗘⦷ PUHV ˉ 0�0� ˉ PD

⑙度࠶䗘⦷ 7UHV ˉ 0�000� ˉ ć

电Ⓚ电压ਈ动 PpVUU �0��3NPD, 0��0ć, �����3��9
%DVH RG 9''   ���9 �9�� ˉ 9�� PD

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器
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2SMPB-02E

I/F 电气⢯ᙝ (ᰖ⢯ࡡ᤽ᇐᰬᶗԬѰTaω25đȽ VDDω1.8VȾ᭥ᤷI2CૂSPIȾѰ设䇗保䇷亯目θуڐ出স测䈋Ⱦ )


�� ,RѪ䗃ࠪㄟᆀ䍏䖭电⍱。

�� ੟动ᵏ䰤⾱→䙊ؑ。
⌘� ,�&的䈖㓶ؑ᚟请参阅ԕл85L。

KWWp�//ZZZ�n[p�FRP/DFUREDWBGRZnORDG/OiWHUDWXUH/939�/393�00���pGI

਺测量模式⢯ᙝ 
(ᰖ⢯ࡡ᤽ᇐᰬᶗԬѰTaω25đȽ VDDω1.8VȽ内䜞CLK仇⦽ω300kHzȾѰ设䇗保䇷亯目θуڐ出স测䈋Ⱦ )

䘸用IIR┚⌘ᰬȼ਺测量模式的rms干扰㿺Ṳ
(ᰖ⢯ࡡ᤽ᇐᰬᶗԬѰTaω25đȽ VDDω1.8VȾѰ设䇗保䇷亯目θуڐ出স测䈋Ⱦ )


 ,,5˖,nIiniWH ,PpXOVH 5HVpRnVH

亯目 符号 Min. Typ. Max. 单位 备⌞

ᮠᆇ䗃ޕL电压 9iOBG ˉ ˉ 9iRî0�� 9

ᮠᆇ䗃ޕ+电压 9iKBG 9iRî0�� ˉ 9iRˇ0�� 9

ᮠᆇ,/2┎ਾ 9iGK\V 9iRî0�� ˉ ˉ 9

ᮠᆇ䗃ࠪL电压(,�&) 9ROBG� 0 ˉ 9iRî0�� 9 ,R˙3PA(S',)
�

ᮠᆇ䗃ࠪL电压(SP,) 9ROBG� 0 ˉ 9iRî0�� 9 ,R˙�PA(S',ǃS'2)
�

ᮠᆇ䗃ࠪ+电压�(SP,)
(9iR! ����9) 9RKBG� 9iRî0�� ˉ ˉ 9 ,R˙�PA(S',ǃS'2)
�

ᮠᆇ䗃ࠪ+电压�(SP,)
(9iR! ���9) 9RKBG� 9iRî0�� ˉ ˉ 9 ,R˙�PA(S',ǃS'2)
�

䗃ࠪ2))ᰦ的┿电⍱ ,RII ��0 ˉ �0 PA S',ǃS'2

内㖞к᣹电䱫 5pXOOXp �0 ��0 �90 Nȍ &S%

,�& 䍏䖭ᇩ量 &E ˉ ˉ �00 p) S', DnG S&.

༽սㄟᆀ䍏䖭ᇩ量 &UVW ˉ ˉ �0 p)

䶎਼步༽ս㜹ߢᇭ度 7UVW �00 ˉ ˉ PVHF PRViWiYH ORJiF

᧕䙊电Ⓚᰦ的
੟动ᰦ䰤 
�

7VWDUW ˉ ˉ �0 PVHF 9RpU ! ����9 ৺ 9iR ! ���9 的电压࣐ᯭ
ਾ 㠣̍ᔰ࿻䙊ؑᡰ䴰的ᰦ䰤

Mode 压力ᒩൽ⅗数 ⑟度ᒩൽ⅗数
䖢ᦘᰬ䰪

(Press.ηTemp.)
Typ.

ᒩൽ电流
@1Hz-Forced Mode

Typ.

ODR
(Standby 1.0msec)

Typ.

rms干扰
 Typ.

单位 ι ι msec PA Hz Pa

+iJK VpHHG � � 5�5 ��� �53 5��

LRZ pRZHU � � ��� 5�� ��� 3��

SWDnGDUG � � �0�� ��3 �� ���

+iJK DFFXUDF\ �� � ���3 ���0 5� ���

8OWUD +iJK DFFXUDF\ 3� � 33�� ���� �� ��3

Mode
਺IIR┚⌘系数ȼrms干扰ϧPaϩ Typ.ٲ

OFF 2 4 8 16 32

+iJK VpHHG 5�� ��5 ��� ��� 0�� 0�5

LRZ pRZHU 3�� ��� ��� 0�� 0�5 0��

SWDnGDUG ��� ��3 0�� 0�5 0�� 0�3

+iJK DFFXUDF\ ��� 0�9 0�� 0�� 0�3 0�3

8OWUD +iJK DFFXUDF\ ��3 0�� 0�� 0�3 0�3 0��

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器 2SMPB-02E

䘸用IIR┚⌘ᰬȼ਺测量模式的ᑜᇳ㿺Ṳ
(ᰖ⢯ࡡ᤽ᇐᰬᶗԬѰTaω25đȽ VDDω1.8VȾѰ设䇗保䇷亯目θуڐ出স测䈋Ⱦ )

਺用䙊的测量模式设ᇐ示例ૂIIR┚⌘设ᇐ示例
(ᰖ⢯ࡡ᤽ᇐᰬᶗԬѰTaω25đȽ VDDω1.8VȾѰ设䇗保䇷亯目θуڐ出স测䈋Ⱦ )

Mode
਺IIR┚⌘系数ȼᑜᇳ[Hz] Typ.ٲ

OFF 2 4 8 16 32

+iJK VpHHG �53�0 35�3 ���� ��� 3�3 ���

LRZ pRZHU ����0 ���0 ���� 5�� ��� ��3

SWDnGDUG ���0 �9�9 ��3 3�� ��� 0�9

+iJK DFFXUDF\ 5��0 ���� ��9 ��3 ��� 0�5

8OWUD +iJK DFFXUDF\ ���0 ��5 ��� ��� 0�� 0�3

使用例 Mode 压力ᒩൽ⅗数 ⑟度ᒩൽ⅗数
㿺Ṳٲ(Typ.ٲ)

IIR┚⌘系数 消耗电流ϧPAϩ ODRϧHzϩ rms干扰ϧPaϩ

:HDWKHU PRniWRUinJ +iJK VpHHG � � 2)) ��� 0�05 5��

'URp GHWHFWiRn LRZ pRZHU � � 2)) �0� �00 3��

(OHYDWRU GHWHFWiRn SWDnGDUG � � � �3�� �0 0��

SWDiU GHWHFWiRn +iJK DFFXUDF\ �� � � ��9 �0 0��

,nGRRU nDYiJDWiRn 8OWUD KiJK DFFXUDF\ 3� � 3� 5�0 �� 0��
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2SMPB-02E

I/F 电气⢯ᙝ (ᰖ⢯ࡡ᤽ᇐᰬᶗԬѰTaω25đȽ VDDω1.8VȾ᭥ᤷI2CૂSPIȾѰ设䇗保䇷亯目θуڐ出স测䈋Ⱦ )


�� ,RѪ䗃ࠪㄟᆀ䍏䖭电⍱。

�� ੟动ᵏ䰤⾱→䙊ؑ。
⌘� ,�&的䈖㓶ؑ᚟请参阅ԕл85L。

KWWp�//ZZZ�n[p�FRP/DFUREDWBGRZnORDG/OiWHUDWXUH/939�/393�00���pGI

਺测量模式⢯ᙝ 
(ᰖ⢯ࡡ᤽ᇐᰬᶗԬѰTaω25đȽ VDDω1.8VȽ内䜞CLK仇⦽ω300kHzȾѰ设䇗保䇷亯目θуڐ出স测䈋Ⱦ )

䘸用IIR┚⌘ᰬȼ਺测量模式的rms干扰㿺Ṳ
(ᰖ⢯ࡡ᤽ᇐᰬᶗԬѰTaω25đȽ VDDω1.8VȾѰ设䇗保䇷亯目θуڐ出স测䈋Ⱦ )


 ,,5˖,nIiniWH ,PpXOVH 5HVpRnVH

亯目 符号 Min. Typ. Max. 单位 备⌞

ᮠᆇ䗃ޕL电压 9iOBG ˉ ˉ 9iRî0�� 9

ᮠᆇ䗃ޕ+电压 9iKBG 9iRî0�� ˉ 9iRˇ0�� 9

ᮠᆇ,/2┎ਾ 9iGK\V 9iRî0�� ˉ ˉ 9

ᮠᆇ䗃ࠪL电压(,�&) 9ROBG� 0 ˉ 9iRî0�� 9 ,R˙3PA(S',)
�

ᮠᆇ䗃ࠪL电压(SP,) 9ROBG� 0 ˉ 9iRî0�� 9 ,R˙�PA(S',ǃS'2)
�

ᮠᆇ䗃ࠪ+电压�(SP,)
(9iR! ����9) 9RKBG� 9iRî0�� ˉ ˉ 9 ,R˙�PA(S',ǃS'2)
�

ᮠᆇ䗃ࠪ+电压�(SP,)
(9iR! ���9) 9RKBG� 9iRî0�� ˉ ˉ 9 ,R˙�PA(S',ǃS'2)
�

䗃ࠪ2))ᰦ的┿电⍱ ,RII ��0 ˉ �0 PA S',ǃS'2

内㖞к᣹电䱫 5pXOOXp �0 ��0 �90 Nȍ &S%

,�& 䍏䖭ᇩ量 &E ˉ ˉ �00 p) S', DnG S&.

༽սㄟᆀ䍏䖭ᇩ量 &UVW ˉ ˉ �0 p)

䶎਼步༽ս㜹ߢᇭ度 7UVW �00 ˉ ˉ PVHF PRViWiYH ORJiF

᧕䙊电Ⓚᰦ的
੟动ᰦ䰤 
�

7VWDUW ˉ ˉ �0 PVHF 9RpU ! ����9 ৺ 9iR ! ���9 的电压࣐ᯭ
ਾ 㠣̍ᔰ࿻䙊ؑᡰ䴰的ᰦ䰤

Mode 压力ᒩൽ⅗数 ⑟度ᒩൽ⅗数
䖢ᦘᰬ䰪

(Press.ηTemp.)
Typ.

ᒩൽ电流
@1Hz-Forced Mode

Typ.

ODR
(Standby 1.0msec)

Typ.

rms干扰
 Typ.

单位 ι ι msec PA Hz Pa

+iJK VpHHG � � 5�5 ��� �53 5��

LRZ pRZHU � � ��� 5�� ��� 3��

SWDnGDUG � � �0�� ��3 �� ���

+iJK DFFXUDF\ �� � ���3 ���0 5� ���

8OWUD +iJK DFFXUDF\ 3� � 33�� ���� �� ��3

Mode
਺IIR┚⌘系数ȼrms干扰ϧPaϩ Typ.ٲ

OFF 2 4 8 16 32

+iJK VpHHG 5�� ��5 ��� ��� 0�� 0�5

LRZ pRZHU 3�� ��� ��� 0�� 0�5 0��

SWDnGDUG ��� ��3 0�� 0�5 0�� 0�3

+iJK DFFXUDF\ ��� 0�9 0�� 0�� 0�3 0�3

8OWUD +iJK DFFXUDF\ ��3 0�� 0�� 0�3 0�3 0��

2SMPB-02E

䘸用IIR┚⌘ᰬȼ਺测量模式的ᑜᇳ㿺Ṳ
(ᰖ⢯ࡡ᤽ᇐᰬᶗԬѰTaω25đȽ VDDω1.8VȾѰ设䇗保䇷亯目θуڐ出স测䈋Ⱦ )

਺用䙊的测量模式设ᇐ示例ૂIIR┚⌘设ᇐ示例
(ᰖ⢯ࡡ᤽ᇐᰬᶗԬѰTaω25đȽ VDDω1.8VȾѰ设䇗保䇷亯目θуڐ出স测䈋Ⱦ )

Mode
਺IIR┚⌘系数ȼᑜᇳ[Hz] Typ.ٲ

OFF 2 4 8 16 32

+iJK VpHHG �53�0 35�3 ���� ��� 3�3 ���

LRZ pRZHU ����0 ���0 ���� 5�� ��� ��3

SWDnGDUG ���0 �9�9 ��3 3�� ��� 0�9

+iJK DFFXUDF\ 5��0 ���� ��9 ��3 ��� 0�5

8OWUD +iJK DFFXUDF\ ���0 ��5 ��� ��� 0�� 0�3

使用例 Mode 压力ᒩൽ⅗数 ⑟度ᒩൽ⅗数
㿺Ṳٲ(Typ.ٲ)

IIR┚⌘系数 消耗电流ϧPAϩ ODRϧHzϩ rms干扰ϧPaϩ

:HDWKHU PRniWRUinJ +iJK VpHHG � � 2)) ��� 0�05 5��

'URp GHWHFWiRn LRZ pRZHU � � 2)) �0� �00 3��

(OHYDWRU GHWHFWiRn SWDnGDUG � � � �3�� �0 0��

SWDiU GHWHFWiRn +iJK DFFXUDF\ �� � � ��9 �0 0��

,nGRRU nDYiJDWiRn 8OWUD KiJK DFFXUDF\ 3� � 3� 5�0 �� 0��

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器
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2SMPB-02E

䘔接

Ṽഴ

ㄥᆆഴ


�� ᰐ䴰༽ս࣏能ᰦˈ请൘P&%к设计ሶ�ਧ䪸(5S7)和�ਧ䪸(G1')єњㄟᆀ᧕地的电路。↔ཆˈ֯⭘༽ս࣏能ᰦˈ请参阅ㅜ'����亥的³Ƶ༽ս࣏能´。 

�� 9ਧ䪸ӵ䲀⅗࿶嗉内䜘֯⭘。䈕ㄟᆀ请य䘋㹼ԫօ䘎᧕。 

9ਧ䪸оަᆳ䪸䘋㹼电䘎᧕ᰦˈՐᝏ器可能ᰐ⌅↓ᑨ动֌。 

ㄥᆆ㕌号 ㄥᆆ੃〦
ㄥᆆ䈪᱄

SPI I2C

� 5S7 䶎਼步༽ս 
�

� &S% &S% 9'',2

3 S', S',/S'2 S'A

� S&. S&. S&L

5 S'2 S'2 A''5

� 9'',2 ᮠᆇ,/2电Ⓚㄟᆀ

� G1' ᧕地ㄟᆀ

� 9'' 电Ⓚㄟᆀ

9 9PP 
 ㄟᆀ⭘ޕ߉190�

VDD GND RST 

CSB 

SDI 

SCK 

SDO

VPP VDDIO 

Pressure/
Temperature 

sensing 
element 

SB 

Sp

Sm 

It

Voltage Supply 

Logic 

ADC 

I/O 

CLK Gen. POR 

NVM 

MUX Analog front-end

GND 

1Pin标ᘍ

ᓋ㿼ഴ京㿼ഴ

1 9 8 

2 7 

3 6 

4 5 

8 9 1 

7 2 

6 3 

5 4 

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器 2SMPB-02E

᧞㦆电䐥ഴ
ᵜՐᝏ器的ᮠᆇ᧕ਓ࠶Ѫ3⿽⁑ᔿ。਴⁑ᔿ的᧘㦀电路മྲлᡰ⽪。

I2C 䙐信模式
᭟ᤱ�00NEpV(SWDnGDUG 0RGH)ǃ �00NEpV()DVW 0RGH)ǃ 3��0EpV(+iJK SpHHG 0RGH)

SPI 䙐信模式(4-Wire)
᭟ᤱ�00EpV

SPI 䙐信模式(3-Wire)
᭟ᤱ�00EpV

CSBGND

VDDIO

VPP 

RST VDD
8 9 1 

7 2 

6 

2SMPB-02E
京㿼ഴ SDI 

3 

SDO SCK
5 4 

Slave address SEL (gnd or VDDIO) 1 PF

RST 

SDA 

SCL 

VDDIO VDD

1 PF

CSBGND

VDDIO

VPP 

RST VDD
8 9 1 

7 2 

6 

2SMPB-02E
京㿼ഴ SDI 

3 

SDO SCK
5 4 

SDO
1 PF

RST 

SDI

SCK 

VDDIO VDD

1 PF

CSB 

CSBGND

VDDIO

VPP 

RST VDD
8 9 1 

7 2 

6 

2SMPB-02E
京㿼ഴ SDI 

3 

SDO SCK
5 4 

1 PF

RST 

SDI/SDO 

SCK 

VDDIO VDD

1 PF

CSB 

D-410
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2SMPB-02E

䘔接

Ṽഴ

ㄥᆆഴ


�� ᰐ䴰༽ս࣏能ᰦˈ请൘P&%к设计ሶ�ਧ䪸(5S7)和�ਧ䪸(G1')єњㄟᆀ᧕地的电路。↔ཆˈ֯⭘༽ս࣏能ᰦˈ请参阅ㅜ'����亥的³Ƶ༽ս࣏能´。 

�� 9ਧ䪸ӵ䲀⅗࿶嗉内䜘֯⭘。䈕ㄟᆀ请य䘋㹼ԫօ䘎᧕。 

9ਧ䪸оަᆳ䪸䘋㹼电䘎᧕ᰦˈՐᝏ器可能ᰐ⌅↓ᑨ动֌。 

ㄥᆆ㕌号 ㄥᆆ੃〦
ㄥᆆ䈪᱄

SPI I2C

� 5S7 䶎਼步༽ս 
�

� &S% &S% 9'',2

3 S', S',/S'2 S'A

� S&. S&. S&L

5 S'2 S'2 A''5

� 9'',2 ᮠᆇ,/2电Ⓚㄟᆀ

� G1' ᧕地ㄟᆀ

� 9'' 电Ⓚㄟᆀ

9 9PP 
 ㄟᆀ⭘ޕ߉190�

VDD GND RST 

CSB 

SDI 

SCK 

SDO

VPP VDDIO 

Pressure/
Temperature 

sensing 
element 

SB 

Sp

Sm 

It

Voltage Supply 

Logic 

ADC 

I/O 

CLK Gen. POR 

NVM 

MUX Analog front-end

GND 

1Pin标ᘍ

ᓋ㿼ഴ京㿼ഴ

1 9 8 

2 7 

3 6 

4 5 

8 9 1 

7 2 

6 3 

5 4 

2SMPB-02E

᧞㦆电䐥ഴ
ᵜՐᝏ器的ᮠᆇ᧕ਓ࠶Ѫ3⿽⁑ᔿ。਴⁑ᔿ的᧘㦀电路മྲлᡰ⽪。

I2C 䙐信模式
᭟ᤱ�00NEpV(SWDnGDUG 0RGH)ǃ �00NEpV()DVW 0RGH)ǃ 3��0EpV(+iJK SpHHG 0RGH)

SPI 䙐信模式(4-Wire)
᭟ᤱ�00EpV

SPI 䙐信模式(3-Wire)
᭟ᤱ�00EpV

CSBGND

VDDIO

VPP 

RST VDD
8 9 1 

7 2 

6 

2SMPB-02E
京㿼ഴ SDI 

3 

SDO SCK
5 4 

Slave address SEL (gnd or VDDIO) 1 PF

RST 

SDA 

SCL 

VDDIO VDD

1 PF

CSBGND

VDDIO

VPP 

RST VDD
8 9 1 

7 2 

6 

2SMPB-02E
京㿼ഴ SDI 

3 

SDO SCK
5 4 

SDO
1 PF

RST 

SDI

SCK 

VDDIO VDD

1 PF

CSB 

CSBGND

VDDIO

VPP 

RST VDD
8 9 1 

7 2 

6 

2SMPB-02E
京㿼ഴ SDI 

3 

SDO SCK
5 4 

1 PF

RST 

SDI/SDO 

SCK 

VDDIO VDD

1 PF

CSB 

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器
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2SMPB-02E

ཌ形ተሮ (单位: mm)

ሷ装
ሱ㻵㊫型˖LGA (LDnG GUiG AUUD\) 9 pin 
ሱ㻵㿴Ṭ˖��00î��50î0��5 PP
ㄟᆀ䜘表面ᶀ䍘˖AX

装䞃PADተሮ
京㿼ഴφ᧞㦆

标ᘍࡱদ

2.00±0.10

2.50±0.10

0.71±0.05

0.46±0.05 0.35

(2.17)

2.32±0.03

0.85±0.10

(1.67)

1.82±0.03

2-P0.65×3=1.95

5-(0.10)

9-0.35

8-(0.10)

9-0.35

1.45

º0.20±0.05

0.55

0.50

0.10
0.35

2.00

2.50

0.65 PITCH

压力ሲޛᆊ

1Pin标ᘍ

PB2E
XXXXX

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器 2SMPB-02E

ᬃ֒

䙐信模式
ᵜՐᝏ器᭟ᤱ,�&和SP,䙊ؑ。

਴䙊ؑѝ਴ㄟᆀ的࣏能ྲлᡰ䘠。

᧕ਓ的࠷ᦒ

· &�,ᦒᡀ࠷
ሶ&S%к᣹ᡀ9'',2ᰦˈ ,�&䙊ؑሶ生᭸。

· ,ᦒᡀSP࠷
ሶ&S%设ѪLᰦˈ SP,䙊ؑሶ生᭸。

↔ཆˈаᰖሶ&S%设ѪLˈਚ㾱нᢗ㹼电Ⓚ21༽սᡆ䶎਼步༽սˈቡнՊ޽䘋ޕ,�&䙊ؑ⁑ᔿ。

3/�ZiUH䙊䗷ᇴᆈ器设ᇊ(Vpi3Z)䘋㹼࠷ᦒ。
⌘� P25ᡆ䖟Ԧ༽սਾˈሶਈѪ,�&。

。Ҿ䖟Ԧ༽սˈ请参阅ㅜ'����亥ѝ³Ȏᇺ存器䈜᛻´亩的³5(S(7´亩ⴞޣ

ࣕ⦽模式
ᵜՐᝏ器备ᴹSOHHp⁑ᔿǃ)RUFHG⁑ᔿǃ1RUPDO⁑ᔿ3⿽动֌⁑ᔿˈ可֯⭘&75LB0(ASᇴᆈ器䘋㹼࠷ᦒ。(䈖ᛵ请参阅³&75LB0(AS
ᇴᆈ器´亩。 )
਴⁑ᔿ的࠷ᦒമྲлᡰ⽪。

Sleep模式
⎸㙇电⍱߿ࡺ⁑ᔿ。

· ,�&(SP,)᧕ਓ䜘的动֌оSOHHp⁑ᔿᰐޣ。

· ൘SOHHp⁑ᔿлҏ可䇯䰞਴ᇴᆈ器。

Forced模式
ṩᦞ设ᇊᆼᡀ测量ਾˈሶ测量؍٬ᆈ㠣ᇴᆈ器ᒦ࠷ᦒ㠣SOHHp⁑ᔿ。

Normal模式
䟽༽ᢗ㹼测量ėᖵ机ė测量的⁑ᔿ。

ᖵ机ᰦ䰤䙊䗷³WBVWDnE\>��0@´䘋㹼设ᇊ。

䙐信ᯯ式 CSB SDI SCK SDO 备⌞

,�& 9'',2 S'A S&L G1'/9'',2
可ṩᦞS'2ㄟᆀ的䗃ޕ电压设ᇊ'HYiFH DGGUHVV。
S'2䘎᧕G1'ᰦ˖�0K
S'2䘎᧕9'',2ᰦ˖5�K

SP, 3㓯 &S% S',/2 S&. ˉ 可䙊䗷ᇴᆈ器Vpi3Z䘋㹼࠷ᦒ。
Vpi3Z˙�˖3㓯䙊ؑ
Vpi3Z˙0˖�㓯䙊ؑSP, �㓯 &S% S', S&. S'2

 

Power_mode[1:0]=11 

Reset [7:0]=E6h

Power_mode[1:0]=00 

Power_mode[1:0]=01 or 10 Power_mode[1:0]=01 or 10 

 

 

POR

Power ON

存۞下䖳

Normal模式Sleep模式

䖥Ԭགྷ位

Forced模式

Read COE_** power_modeȼ[1:0] = 01 or 10 power_mode[1:0] = 01 or 10

Power OnPower Off

. . .sleep sleepPOR 存۞下䖳 测量⑟度 × temp_average [2:0] 测量压力 × press_average [2:0] 测量⑟度 × temp_average [2:0]

t_stanby [s]Read COE_** power_mode [1:0] = 11

Power OnPower Off

. . .sleep sleepPOR 存۞下䖳 测量⑟度 × temp_average [2:0] 测量压力 × press_average [2:0] 测量⑟度 × temp_average [2:0]
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2SMPB-02E

ཌ形ተሮ (单位: mm)

ሷ装
ሱ㻵㊫型˖LGA (LDnG GUiG AUUD\) 9 pin 
ሱ㻵㿴Ṭ˖��00î��50î0��5 PP
ㄟᆀ䜘表面ᶀ䍘˖AX

装䞃PADተሮ
京㿼ഴφ᧞㦆

标ᘍࡱদ

2.00±0.10

2.50±0.10

0.71±0.05

0.46±0.05 0.35

(2.17)

2.32±0.03

0.85±0.10

(1.67)

1.82±0.03

2-P0.65×3=1.95

5-(0.10)

9-0.35

8-(0.10)

9-0.35

1.45

º0.20±0.05

0.55

0.50

0.10
0.35

2.00

2.50

0.65 PITCH

压力ሲޛᆊ

1Pin标ᘍ

PB2E
XXXXX

2SMPB-02E

ᬃ֒

䙐信模式
ᵜՐᝏ器᭟ᤱ,�&和SP,䙊ؑ。

਴䙊ؑѝ਴ㄟᆀ的࣏能ྲлᡰ䘠。

᧕ਓ的࠷ᦒ

· &�,ᦒᡀ࠷
ሶ&S%к᣹ᡀ9'',2ᰦˈ ,�&䙊ؑሶ生᭸。

· ,ᦒᡀSP࠷
ሶ&S%设ѪLᰦˈ SP,䙊ؑሶ生᭸。

↔ཆˈаᰖሶ&S%设ѪLˈਚ㾱нᢗ㹼电Ⓚ21༽սᡆ䶎਼步༽սˈቡнՊ޽䘋ޕ,�&䙊ؑ⁑ᔿ。

3/�ZiUH䙊䗷ᇴᆈ器设ᇊ(Vpi3Z)䘋㹼࠷ᦒ。
⌘� P25ᡆ䖟Ԧ༽սਾˈሶਈѪ,�&。

。Ҿ䖟Ԧ༽սˈ请参阅ㅜ'����亥ѝ³Ȏᇺ存器䈜᛻´亩的³5(S(7´亩ⴞޣ

ࣕ⦽模式
ᵜՐᝏ器备ᴹSOHHp⁑ᔿǃ)RUFHG⁑ᔿǃ1RUPDO⁑ᔿ3⿽动֌⁑ᔿˈ可֯⭘&75LB0(ASᇴᆈ器䘋㹼࠷ᦒ。(䈖ᛵ请参阅³&75LB0(AS
ᇴᆈ器´亩。 )
਴⁑ᔿ的࠷ᦒമྲлᡰ⽪。

Sleep模式
⎸㙇电⍱߿ࡺ⁑ᔿ。

· ,�&(SP,)᧕ਓ䜘的动֌оSOHHp⁑ᔿᰐޣ。

· ൘SOHHp⁑ᔿлҏ可䇯䰞਴ᇴᆈ器。

Forced模式
ṩᦞ设ᇊᆼᡀ测量ਾˈሶ测量؍٬ᆈ㠣ᇴᆈ器ᒦ࠷ᦒ㠣SOHHp⁑ᔿ。

Normal模式
䟽༽ᢗ㹼测量ėᖵ机ė测量的⁑ᔿ。

ᖵ机ᰦ䰤䙊䗷³WBVWDnE\>��0@´䘋㹼设ᇊ。

䙐信ᯯ式 CSB SDI SCK SDO 备⌞

,�& 9'',2 S'A S&L G1'/9'',2
可ṩᦞS'2ㄟᆀ的䗃ޕ电压设ᇊ'HYiFH DGGUHVV。
S'2䘎᧕G1'ᰦ˖�0K
S'2䘎᧕9'',2ᰦ˖5�K

SP, 3㓯 &S% S',/2 S&. ˉ 可䙊䗷ᇴᆈ器Vpi3Z䘋㹼࠷ᦒ。
Vpi3Z˙�˖3㓯䙊ؑ
Vpi3Z˙0˖�㓯䙊ؑSP, �㓯 &S% S', S&. S'2

 

Power_mode[1:0]=11 

Reset [7:0]=E6h

Power_mode[1:0]=00 

Power_mode[1:0]=01 or 10 Power_mode[1:0]=01 or 10 

 

 

POR

Power ON

存۞下䖳

Normal模式Sleep模式

䖥Ԭགྷ位

Forced模式

Read COE_** power_modeȼ[1:0] = 01 or 10 power_mode[1:0] = 01 or 10

Power OnPower Off

. . .sleep sleepPOR 存۞下䖳 测量⑟度 × temp_average [2:0] 测量压力 × press_average [2:0] 测量⑟度 × temp_average [2:0]

t_stanby [s]Read COE_** power_mode [1:0] = 11

Power OnPower Off

. . .sleep sleepPOR 存۞下䖳 测量⑟度 × temp_average [2:0] 测量压力 × press_average [2:0] 测量⑟度 × temp_average [2:0]

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器
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2SMPB-02E

压力补偿਀⑟度补偿ᯯ⌋
ᵜՐᝏ器的内䜘䶎᱃ཡᙗᆈۘ器ѝ؍ᆈᴹ㺕گ㌫ᮠ。可֯⭘䈕㺕گ㌫ᮠ计㇇压࣋৺⑙度。

ķ ᶴᡀ,2⁑ᔿ的设ᇊ。䈖ᛵ请参阅,2BS(78P的ㄐ㢲。

ĸ 请䈫ਆ190ѝ؍ᆈ的㺕گ㌫ᮠ。ਚ䴰൘P25ਾᢗ㹼а⅑䈕步僔ণ可。䘉Ӌ٬ሶ⭘Ҿ步僔ļǃĽ的㺕گ䘀㇇。

⌘�䈫ਆ㺕گ㌫ᮠਾˈ൘ла⅑䙊ؑࡽ请⮉ࠪ�PVHFԕк的ᖵ机ᰦ䰤。

Ĺ 设ᇊ平൷༴⨶⅑ᮠ和动֌⁑ᔿ。䈖ᛵ请参阅&75LB0(ASᇴᆈ器的ㄐ㢲。

ĺ 䈫ਆ7(0PB7;'[ᇴᆈ器ѝ؍ᆈ的⑙度的UDZ 'DWD。
Ļ 䈫ਆP5(SSB7;'[ᇴᆈ器ѝ؍ᆈ的压࣋的UDZ 'DWD。
ļ ⑙度㺕گ可൘лᔿѝ֯⭘步僔ĸǃĺ的٬䘋㹼计㇇。

7U � &DOFXODWiRn 5HVXOW RI 7HPpHUDWXUH ( 7U/�5�   7HPpHUDWXUH >GHJUHH &@ )
H�J)  ,I 7U 9DOXH iV ��00 LS%, 

'W � 5DZ 7HPpHUDWXUH 'DWD >GiJiW@ ( �0���EiWV PHDVXUHPHnW YDOXH RI 7(0PB7;'[ 5HJ� )
D0 � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI P7A7 ( 190 UHJiVWHU� &2(BD0BH[, &2(BD0B0, &2(BD0B� ) 
D� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI P7A7 ( 190 UHJiVWHU� &2(BD�B0, &2(BD�B� ) 
D� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI P7A7 ( 190 UHJiVWHU� &2(BD�B0, &2(BD�B� ) 

φ䙐䗽数字接口䘑㺂䈱ߏ

φ使用用ᡭ的MCU䘑㺂䇗㇍

COE_**的MSBѰ符号位Ⱦ

START

Ś ⭧IO_SETUPᇺ存器构ᡆ
IO模式的设ᇐȾ

ś 䙐䗽NVM䈱਌补偿系数Ⱦ
(COE_**)

Ŝ 设ᇐᒩൽ༺⨼⅗数ૂ动֒模式Ⱦ

ŝ 䈱਌ᵠ补偿的⑟度ٲȾ
(TEMP_TXDx)

Ş 䈱਌ᵠ补偿的压力ٲȾ
(PRESS_TXDx)

ş 补偿⑟度ٲȾ

Š 补偿压力ٲȾ

���	������������������������  

Temperature (degreeC) = 25.00 degreeC= =
Tr Value (LSB)
Scaling Factor

6400 LSB
256 LSB/degree C

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器 2SMPB-02E

Ľ ⑙度㺕گ压࣋可൘лᔿѝ֯⭘步僔ĸǃĻǃļ的٬䘋㹼计㇇。

PU � &DOFXODWiRn 5HVXOW RI PUHVVXUH >PD@ 
7U � &DOFXODWiRn 5HVXOW RI 7HPpHUDWXUH ( 7U/�5�   7HPpHUDWXUH >GHJUHH&@ )
'p � 5DZ PUHVVXUH 'DWD >GiJiW@ ( �0���EiWV PHDVXUHPHnW YDOXH RI P5(SSB7;'[ 5HJ� )
E00 � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BE00BH[, &2(BE00B0, &2(BE00B� )
EW� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BEW�B0, &2(BEW�B� ) 
Ep� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BEp�B0, &2(BEp�B� ) 
E�� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BE��B0, &2(BE��B� )
EW� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BEW�B0, &2(BEW�B� ) 
Ep� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BEp�B0, &2(BEp�B� )
E�� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BE��B0, &2(BE��B� )
E�� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BE��B0, &2(BE��B� )
Ep3 � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BEp3B0, &2(BEp3B� )

㧭਌补偿系数的ᯯ⌋
਴㺕گ㌫ᮠ可֯⭘ԕл公ᔿ的䖜ᦒ㌫ᮠ䘋㹼计㇇。

K
Conversion factor OTP

A S 23-16 bit 15-8 bit 7-0 bit

D� ���3(�03 ��3(�0� � &2(BD�B� &2(BD�B0

D� ���9(��� ���(��0 � &2(BD�B� &2(BD�B0

EW� ��0(�0� 9��(�0� � &2(BEW�B� &2(BEW�B0

EW� ���(�0� ���(�0� � &2(BEW�B� &2(BEW�B0

Ep� 3�3(�0� ��9(�0� � &2(BEp�B� &2(BEp�B0

E�� ���(�0� ���(�0� � &2(BE��B� &2(BE��B0

Ep� ���3(��0 3�5(��0 � &2(BEp�B� &2(BEp�B0

E�� ��9(��3 ���(��3 � &2(BE��B� &2(BE��B0

E�� ���(��5 ���(��� � &2(BE��B� &2(BE��B0

Ep3 ��3(��� ��9(��� � &2(BEp3B� &2(BEp3B0

K Conversion factor
OTP

19-12 bit 11-4 bit 3-0 bit

D0 2IIVHW YDOXH (�04��) &2(BD0B� &2(BD0B0 &2(BD0BH[

E00 2IIVHW YDOXH (�04��) &2(BE00B� &2(BE00B0 &2(BE00BH[

���	�����������������������������������������������2����� 2�����2����� 2

����������������������� 2����������� 2�����������������

K = A + S × 
��
�����

K = ······a0, b00

��
��

······a1, a2, bt1, bt2, bp1, b11, bp2, b12, b21, bp3
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2SMPB-02E

压力补偿਀⑟度补偿ᯯ⌋
ᵜՐᝏ器的内䜘䶎᱃ཡᙗᆈۘ器ѝ؍ᆈᴹ㺕گ㌫ᮠ。可֯⭘䈕㺕گ㌫ᮠ计㇇压࣋৺⑙度。

ķ ᶴᡀ,2⁑ᔿ的设ᇊ。䈖ᛵ请参阅,2BS(78P的ㄐ㢲。

ĸ 请䈫ਆ190ѝ؍ᆈ的㺕گ㌫ᮠ。ਚ䴰൘P25ਾᢗ㹼а⅑䈕步僔ণ可。䘉Ӌ٬ሶ⭘Ҿ步僔ļǃĽ的㺕گ䘀㇇。

⌘�䈫ਆ㺕گ㌫ᮠਾˈ൘ла⅑䙊ؑࡽ请⮉ࠪ�PVHFԕк的ᖵ机ᰦ䰤。

Ĺ 设ᇊ平൷༴⨶⅑ᮠ和动֌⁑ᔿ。䈖ᛵ请参阅&75LB0(ASᇴᆈ器的ㄐ㢲。

ĺ 䈫ਆ7(0PB7;'[ᇴᆈ器ѝ؍ᆈ的⑙度的UDZ 'DWD。
Ļ 䈫ਆP5(SSB7;'[ᇴᆈ器ѝ؍ᆈ的压࣋的UDZ 'DWD。
ļ ⑙度㺕گ可൘лᔿѝ֯⭘步僔ĸǃĺ的٬䘋㹼计㇇。

7U � &DOFXODWiRn 5HVXOW RI 7HPpHUDWXUH ( 7U/�5�   7HPpHUDWXUH >GHJUHH &@ )
H�J)  ,I 7U 9DOXH iV ��00 LS%, 

'W � 5DZ 7HPpHUDWXUH 'DWD >GiJiW@ ( �0���EiWV PHDVXUHPHnW YDOXH RI 7(0PB7;'[ 5HJ� )
D0 � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI P7A7 ( 190 UHJiVWHU� &2(BD0BH[, &2(BD0B0, &2(BD0B� ) 
D� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI P7A7 ( 190 UHJiVWHU� &2(BD�B0, &2(BD�B� ) 
D� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI P7A7 ( 190 UHJiVWHU� &2(BD�B0, &2(BD�B� ) 

φ䙐䗽数字接口䘑㺂䈱ߏ

φ使用用ᡭ的MCU䘑㺂䇗㇍

COE_**的MSBѰ符号位Ⱦ

START

Ś ⭧IO_SETUPᇺ存器构ᡆ
IO模式的设ᇐȾ

ś 䙐䗽NVM䈱਌补偿系数Ⱦ
(COE_**)

Ŝ 设ᇐᒩൽ༺⨼⅗数ૂ动֒模式Ⱦ

ŝ 䈱਌ᵠ补偿的⑟度ٲȾ
(TEMP_TXDx)

Ş 䈱਌ᵠ补偿的压力ٲȾ
(PRESS_TXDx)

ş 补偿⑟度ٲȾ

Š 补偿压力ٲȾ

���	������������������������  

Temperature (degreeC) = 25.00 degreeC= =
Tr Value (LSB)
Scaling Factor

6400 LSB
256 LSB/degree C

2SMPB-02E

Ľ ⑙度㺕گ压࣋可൘лᔿѝ֯⭘步僔ĸǃĻǃļ的٬䘋㹼计㇇。

PU � &DOFXODWiRn 5HVXOW RI PUHVVXUH >PD@ 
7U � &DOFXODWiRn 5HVXOW RI 7HPpHUDWXUH ( 7U/�5�   7HPpHUDWXUH >GHJUHH&@ )
'p � 5DZ PUHVVXUH 'DWD >GiJiW@ ( �0���EiWV PHDVXUHPHnW YDOXH RI P5(SSB7;'[ 5HJ� )
E00 � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BE00BH[, &2(BE00B0, &2(BE00B� )
EW� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BEW�B0, &2(BEW�B� ) 
Ep� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BEp�B0, &2(BEp�B� ) 
E�� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BE��B0, &2(BE��B� )
EW� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BEW�B0, &2(BEW�B� ) 
Ep� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BEp�B0, &2(BEp�B� )
E�� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BE��B0, &2(BE��B� )
E�� � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BE��B0, &2(BE��B� )
Ep3 � &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW RI PUHVVXUH ( 190 UHJiVWHU� &2(BEp3B0, &2(BEp3B� )

㧭਌补偿系数的ᯯ⌋
਴㺕گ㌫ᮠ可֯⭘ԕл公ᔿ的䖜ᦒ㌫ᮠ䘋㹼计㇇。

K
Conversion factor OTP

A S 23-16 bit 15-8 bit 7-0 bit

D� ���3(�03 ��3(�0� � &2(BD�B� &2(BD�B0

D� ���9(��� ���(��0 � &2(BD�B� &2(BD�B0

EW� ��0(�0� 9��(�0� � &2(BEW�B� &2(BEW�B0

EW� ���(�0� ���(�0� � &2(BEW�B� &2(BEW�B0

Ep� 3�3(�0� ��9(�0� � &2(BEp�B� &2(BEp�B0

E�� ���(�0� ���(�0� � &2(BE��B� &2(BE��B0

Ep� ���3(��0 3�5(��0 � &2(BEp�B� &2(BEp�B0

E�� ��9(��3 ���(��3 � &2(BE��B� &2(BE��B0

E�� ���(��5 ���(��� � &2(BE��B� &2(BE��B0

Ep3 ��3(��� ��9(��� � &2(BEp3B� &2(BEp3B0

K Conversion factor
OTP

19-12 bit 11-4 bit 3-0 bit

D0 2IIVHW YDOXH (�04��) &2(BD0B� &2(BD0B0 &2(BD0BH[

E00 2IIVHW YDOXH (�04��) &2(BE00B� &2(BE00B0 &2(BE00BH[

���	�����������������������������������������������2����� 2�����2����� 2

����������������������� 2����������� 2�����������������

K = A + S × 
��
�����

K = ······a0, b00

��
��

······a1, a2, bt1, bt2, bp1, b11, bp2, b12, b21, bp3

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器
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2SMPB-02E

装䞃ᇺ存器ж㿾㺞
测量/控制用ᇺ存器 I2C䙐信ᰬφRegister Address的Ctl.രᇐѰ“1”

(
) P5(SSB7;'[ǃ 7(0PB7;'[৺&2(B

的0S%Ѫㅖਧս。
'DWDѝḷ䇠³ˉ´༴和5HJiVWHUAGGUHVVѝᵚ⌘᰾的地൰४ฏᵚᆹ㻵ᇴᆈ器。
ᰐ⌅ޕ߉ᵚᆹ㻵ᇴᆈ器的४ฏ。↔ཆˈ䈫ਆᰦሶ䘄എ³0´٬。

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

Descriptions Initial
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

7(0PB7;'0 )&K �&K 5/ˉ WBW[G0>��0@ 7HPpHUDWXUH 'A7A >���@ in �� EiWV 00K

7(0PB7;'� )%K �%K 5/ˉ WBW[G�>��0@ 7HPpHUDWXUH 'A7A >���9@ in �� EiWV 00K

7(0PB7;'� )AK �AK 5/ˉ WBW[G�>��0@ 7HPpHUDWXUH 'A7A >�����@ in �� EiWV(
) 00K

P5(SSB7;'0 )9K �9K 5/ˉ pBW[G0>��0@ PUHVVXUH 'A7A >���@ in �� EiWV 00K

P5(SSB7;'� )�K ��K 5/ˉ pBW[G�>��0@ PUHVVXUH 'A7A >���9@ in �� EiWV 00K

P5(SSB7;'� )�K ��K 5/ˉ pBW[G�>��0@ PUHVVXUH 'A7A >�����@ in �� EiWV(
) 00K

,2BS(78P )5K �5K 5/: WBVWDnE\>��0@ ˉ Vpi3BVGiP ˉ Vpi3Z
WBVWDnE\>��0@ � SWDnGE\ WiPH VHWWinJ 
Vpi3Z � SP, PRGH VHWWinJ (� RU 3�ZiUH)
Vpi3BVGiP � SHOHFW RXWpXW W\pH RI S', WHUPinDO

00K

&75LB0(AS )�K ��K 5/: WHPpBDYHUDJH>��0@ pUHVVBDYHUDJH>��0@ pRZHUBPRGH>��0@
WHPpBDYHUDJH>��0@ � 7HPpHUDWXUH AYHUDJinJ 7iPHV
pUHVVBDYHUDJH>��0@ � PUHVVXUH AYHUDJinJ 7iPHV
pRZHUBPRGH>��0@ � PRZHU PRGH VHWWinJ

00K

'(9,&(BS7A7 )3K �3K 5/ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ PHDVXUH ˉ ˉ RWpBXpGDWH PHDVXUH � SWDWXV RI PHDVXUHPHnW 
RWpBXpGDWH � SWDWXV RI 27P GDWD DFFHVV 00K

,�&BS(7 )�K ��K 5/: ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ PDVWHUBFRGH>��0@ 0DVWHU FRGH VHWWinJ DW ,�& +S PRGH 0�K

,,5B&17 )�K ��K 5/: ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ IiOWHU>��0@ ,,5 IiOWHU FR�HIIiFiHnW VHWWinJ 00K

5(S(7 (0K �0K ˉ/: UHVHW>��0@ :KHn inpXWWinJ �(�K�, 
D VRIWZDUH UHVHW ZiOO EH RFFXUUHG� 00K

&+,PB,' '�K 5�K 5/ˉ FKipBiG>��0@ &+,PB,'� � 5&K 5&K

&2(BE00BD0BH[ %�K 3�K 5/� E00>3�0@ D0>3�0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BD�B0 %�K 3�K 5/� D�>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BD�B� %�K 3�K 5/� D�>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BD�B0 %5K 35K 5/� D�>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BD�B� %�K 3�K 5/� D�>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BD0B0 %3K 33K 5/� D0>����@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BD0B� %�K 3�K 5/� D0>�9���@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BEp3B0 %�K 3�K 5/� Ep3>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BEp3B� %0K 30K 5/� Ep3>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BE��B0 A)K �)K 5/� E��>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BE��B� A(K �(K 5/� E��>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BE��B0 A'K �'K 5/� E��>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BE��B� A&K �&K 5/� E��>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BEp�B0 A%K �%K 5/� Ep�>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BEp�B� AAK �AK 5/� Ep�>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BE��B0 A9K �9K 5/� E��>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BE��B� A�K ��K 5/� E��>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BEp�B0 A�K ��K 5/� Ep�>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BEp�B� A�K ��K 5/� Ep�>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BEW�B0 A5K �5K 5/� EW�>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BEW�B� A�K ��K 5/� EW�>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BEW�B0 A3K �3K 5/� EW�>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BEW�B� A�K ��K 5/� EW�>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BE00B0 A�K ��K 5/� E00>����@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BE00B� A0K �0K 5/� E00>�9���@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器 2SMPB-02E

ᇺ存器䈜᛻
TEMP(PRESS)_TXDx φ ⑟度(压力)数ᦤ TXD0ȽTXD1 or TXD2

֯⭘��̚��EiW㋮度的ᮠᦞ؍ᤱA'&䗃ࠪ。

可ԕ��EiWѪঅս㧧ਆᮠᦞ。㋮度࢙։ᰦˈվսEiWѪ³0´(лമ的哴㢢䜘࠶Ѫᴹ᭸ᮠᦞ)。

⌘�� 'n('�3̚'0)˖SHnVRUᮠᦞㅜn EiW的٬(�ᡆ0)
� � ৏测量٬Ѫᰐㅖਧ的��EiW٬。 ��EiW的䗃ࠪ⁑ᔿлˈ䴰߿৫��3。

'p和'W的计㇇㕆〻⽪ֻྲлᡰ⽪。

'W   ((7(0PB7;'�) ����) � ((7(0PB7;'�) �� �) � (7(0PB7;'0) � pRZ(�,�3) 
'p   ((P5(SSB7;'�) ����) � ((P5(SSB7;'�) �� �) � (P5(SSB7;'0) � pRZ(�,�3)

IO_SETUP φ I/O 设ᇐ用ᇺ存器

EiW�̚5 WBVWDnE\>��0@ ᖵ机ᰦ䰤(7\p�)的设ᇊ

⌘� ᖵ机ᰦ䰤可䙊䗷ሩAS,&内䜘ᖵ机ᰦ䫏䘋㹼计ᮠᶕ⺞ᇊ。
AS,&内䜘ᖵ机ᰦ䫏的仁⦷൘�N+]��00ˁ的㤳ത内ᴹᡰٿᐞ。
ഐ↔ˈᖵ机ᰦ䰤ҏՊ൘ᖵ机ᰦ䰤(7\p�)的设ᇊ٬��00ˁ的㤳ത内ᴹᡰٿᐞ。

EiW�, 3 5HVHUYHG ᵚ֯⭘。ޕ߉ᰦ请设Ѫ0。
EiW� Vpi3BVGiP 。ᦒSP,3㓯䙊ؑᰦ的S',䗃ࠪᖒᔿ࠷

  0˖ LR / +i�=䗃ࠪ('HIDXOW)
  �˖ LR / +i䗃ࠪ

EiW� 5HVHUYHG ᵚ֯⭘。ޕ߉ᰦ请设Ѫ0。
EiW0 Vpi3Z 。ᦒSP,䙊ؑᰦ的3㓯/�㓯࠷

  0˖ �㓯('HIDXOW)
  �˖ 3㓯

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

7(0PB7;'0 )&K �&K 5/ˉ WBW[G0>��0@ 00K

7(0PB7;'� )%K �%K 5/ˉ WBW[G�>��0@ 00K

7(0PB7;'� )AK �AK 5/ˉ WBW[G�>��0@ 00K

P5(SSB7;'0 )9K �9K 5/ˉ pBW[G0>��0@ 00K

P5(SSB7;'� )�K ��K 5/ˉ pBW[G�>��0@ 00K

P5(SSB7;'� )�K ��K 5/ˉ pBW[G�>��0@ 00K

bit 24 23 22 … 5 4 3 2 1 备⌞

��EiWV䗃ࠪ '�� '�0 '�9 « '� '� '0 0 0 7HPp/PUHVVBDYH   00�

�3EiWV䗃ࠪ '�� '�� '�0 « '3 '� '� '0 0 7HPp/PUHVVBDYH   0�0

��EiWV䗃ࠪ '�3 '�� '�� « '� '3 '� '� '0 7HPp/PUHVVBDYH   0��̚���

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

,2BS(78P )5K �5K 5/: WBVWDnE\>��0@ ˉ ˉ Vpi3BVGiP ˉ Vpi3Z 00K

000 001 010 011 100 101 110 111

�PV 5PV 50PV �50PV 500PV �V �V �V
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2SMPB-02E

装䞃ᇺ存器ж㿾㺞
测量/控制用ᇺ存器 I2C䙐信ᰬφRegister Address的Ctl.രᇐѰ“1”

(
) P5(SSB7;'[ǃ 7(0PB7;'[৺&2(B

的0S%Ѫㅖਧս。
'DWDѝḷ䇠³ˉ´༴和5HJiVWHUAGGUHVVѝᵚ⌘᰾的地൰४ฏᵚᆹ㻵ᇴᆈ器。
ᰐ⌅ޕ߉ᵚᆹ㻵ᇴᆈ器的४ฏ。↔ཆˈ䈫ਆᰦሶ䘄എ³0´٬。

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

Descriptions Initial
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

7(0PB7;'0 )&K �&K 5/ˉ WBW[G0>��0@ 7HPpHUDWXUH 'A7A >���@ in �� EiWV 00K

7(0PB7;'� )%K �%K 5/ˉ WBW[G�>��0@ 7HPpHUDWXUH 'A7A >���9@ in �� EiWV 00K

7(0PB7;'� )AK �AK 5/ˉ WBW[G�>��0@ 7HPpHUDWXUH 'A7A >�����@ in �� EiWV(
) 00K

P5(SSB7;'0 )9K �9K 5/ˉ pBW[G0>��0@ PUHVVXUH 'A7A >���@ in �� EiWV 00K

P5(SSB7;'� )�K ��K 5/ˉ pBW[G�>��0@ PUHVVXUH 'A7A >���9@ in �� EiWV 00K

P5(SSB7;'� )�K ��K 5/ˉ pBW[G�>��0@ PUHVVXUH 'A7A >�����@ in �� EiWV(
) 00K

,2BS(78P )5K �5K 5/: WBVWDnE\>��0@ ˉ Vpi3BVGiP ˉ Vpi3Z
WBVWDnE\>��0@ � SWDnGE\ WiPH VHWWinJ 
Vpi3Z � SP, PRGH VHWWinJ (� RU 3�ZiUH)
Vpi3BVGiP � SHOHFW RXWpXW W\pH RI S', WHUPinDO

00K

&75LB0(AS )�K ��K 5/: WHPpBDYHUDJH>��0@ pUHVVBDYHUDJH>��0@ pRZHUBPRGH>��0@
WHPpBDYHUDJH>��0@ � 7HPpHUDWXUH AYHUDJinJ 7iPHV
pUHVVBDYHUDJH>��0@ � PUHVVXUH AYHUDJinJ 7iPHV
pRZHUBPRGH>��0@ � PRZHU PRGH VHWWinJ

00K

'(9,&(BS7A7 )3K �3K 5/ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ PHDVXUH ˉ ˉ RWpBXpGDWH PHDVXUH � SWDWXV RI PHDVXUHPHnW 
RWpBXpGDWH � SWDWXV RI 27P GDWD DFFHVV 00K

,�&BS(7 )�K ��K 5/: ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ PDVWHUBFRGH>��0@ 0DVWHU FRGH VHWWinJ DW ,�& +S PRGH 0�K

,,5B&17 )�K ��K 5/: ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ IiOWHU>��0@ ,,5 IiOWHU FR�HIIiFiHnW VHWWinJ 00K

5(S(7 (0K �0K ˉ/: UHVHW>��0@ :KHn inpXWWinJ �(�K�, 
D VRIWZDUH UHVHW ZiOO EH RFFXUUHG� 00K

&+,PB,' '�K 5�K 5/ˉ FKipBiG>��0@ &+,PB,'� � 5&K 5&K

&2(BE00BD0BH[ %�K 3�K 5/� E00>3�0@ D0>3�0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BD�B0 %�K 3�K 5/� D�>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BD�B� %�K 3�K 5/� D�>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BD�B0 %5K 35K 5/� D�>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BD�B� %�K 3�K 5/� D�>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BD0B0 %3K 33K 5/� D0>����@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BD0B� %�K 3�K 5/� D0>�9���@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BEp3B0 %�K 3�K 5/� Ep3>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BEp3B� %0K 30K 5/� Ep3>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BE��B0 A)K �)K 5/� E��>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BE��B� A(K �(K 5/� E��>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BE��B0 A'K �'K 5/� E��>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BE��B� A&K �&K 5/� E��>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BEp�B0 A%K �%K 5/� Ep�>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BEp�B� AAK �AK 5/� Ep�>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BE��B0 A9K �9K 5/� E��>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BE��B� A�K ��K 5/� E��>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BEp�B0 A�K ��K 5/� Ep�>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BEp�B� A�K ��K 5/� Ep�>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BEW�B0 A5K �5K 5/� EW�>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BEW�B� A�K ��K 5/� EW�>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BEW�B0 A3K �3K 5/� EW�>��0@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BEW�B� A�K ��K 5/� EW�>�5��@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

&2(BE00B0 A�K ��K 5/� E00>����@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˉ

&2(BE00B� A0K �0K 5/� E00>�9���@ &RPpHnVDWiRn &RHIIiFiHnW ˄ 
˅ ˉ

2SMPB-02E

ᇺ存器䈜᛻
TEMP(PRESS)_TXDx φ ⑟度(压力)数ᦤ TXD0ȽTXD1 or TXD2

֯⭘��̚��EiW㋮度的ᮠᦞ؍ᤱA'&䗃ࠪ。

可ԕ��EiWѪঅս㧧ਆᮠᦞ。㋮度࢙։ᰦˈվսEiWѪ³0´(лമ的哴㢢䜘࠶Ѫᴹ᭸ᮠᦞ)。

⌘�� 'n('�3̚'0)˖SHnVRUᮠᦞㅜn EiW的٬(�ᡆ0)
� � ৏测量٬Ѫᰐㅖਧ的��EiW٬。 ��EiW的䗃ࠪ⁑ᔿлˈ䴰߿৫��3。

'p和'W的计㇇㕆〻⽪ֻྲлᡰ⽪。

'W   ((7(0PB7;'�) ����) � ((7(0PB7;'�) �� �) � (7(0PB7;'0) � pRZ(�,�3) 
'p   ((P5(SSB7;'�) ����) � ((P5(SSB7;'�) �� �) � (P5(SSB7;'0) � pRZ(�,�3)

IO_SETUP φ I/O 设ᇐ用ᇺ存器

EiW�̚5 WBVWDnE\>��0@ ᖵ机ᰦ䰤(7\p�)的设ᇊ

⌘� ᖵ机ᰦ䰤可䙊䗷ሩAS,&内䜘ᖵ机ᰦ䫏䘋㹼计ᮠᶕ⺞ᇊ。
AS,&内䜘ᖵ机ᰦ䫏的仁⦷൘�N+]��00ˁ的㤳ത内ᴹᡰٿᐞ。
ഐ↔ˈᖵ机ᰦ䰤ҏՊ൘ᖵ机ᰦ䰤(7\p�)的设ᇊ٬��00ˁ的㤳ത内ᴹᡰٿᐞ。

EiW�, 3 5HVHUYHG ᵚ֯⭘。ޕ߉ᰦ请设Ѫ0。
EiW� Vpi3BVGiP 。ᦒSP,3㓯䙊ؑᰦ的S',䗃ࠪᖒᔿ࠷

  0˖ LR / +i�=䗃ࠪ('HIDXOW)
  �˖ LR / +i䗃ࠪ

EiW� 5HVHUYHG ᵚ֯⭘。ޕ߉ᰦ请设Ѫ0。
EiW0 Vpi3Z 。ᦒSP,䙊ؑᰦ的3㓯/�㓯࠷

  0˖ �㓯('HIDXOW)
  �˖ 3㓯

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

7(0PB7;'0 )&K �&K 5/ˉ WBW[G0>��0@ 00K

7(0PB7;'� )%K �%K 5/ˉ WBW[G�>��0@ 00K

7(0PB7;'� )AK �AK 5/ˉ WBW[G�>��0@ 00K

P5(SSB7;'0 )9K �9K 5/ˉ pBW[G0>��0@ 00K

P5(SSB7;'� )�K ��K 5/ˉ pBW[G�>��0@ 00K

P5(SSB7;'� )�K ��K 5/ˉ pBW[G�>��0@ 00K

bit 24 23 22 … 5 4 3 2 1 备⌞

��EiWV䗃ࠪ '�� '�0 '�9 « '� '� '0 0 0 7HPp/PUHVVBDYH   00�

�3EiWV䗃ࠪ '�� '�� '�0 « '3 '� '� '0 0 7HPp/PUHVVBDYH   0�0

��EiWV䗃ࠪ '�3 '�� '�� « '� '3 '� '� '0 7HPp/PUHVVBDYH   0��̚���

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

,2BS(78P )5K �5K 5/: WBVWDnE\>��0@ ˉ ˉ Vpi3BVGiP ˉ Vpi3Z 00K

000 001 010 011 100 101 110 111

�PV 5PV 50PV �50PV 500PV �V �V �V

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器
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2SMPB-02E

CTRL_MEAS : 测量ᶗԬ设ᇐ用ᇺ存器

EiW�̚5 WHPpBDYHUDJH>��0@ ⑙度ᮠᦞ的平൷༴⨶⅑ᮠ(VNipн䘋㹼测量。 )

EiW�̚� pUHVVBDYHUDJH>��0@ 压࣋ᮠᦞ的平൷༴⨶⅑ᮠ(VNipн䘋㹼测量。 )

EiW�̚0 pRZHUBPRGH>��0@ 动֌⁑ᔿ的设ᇊ

  00˖ SOHHp⁑ᔿ

  0�, �0˖)RUFHG⁑ᔿ

  ��˖ 1RUPDO⁑ᔿ

DEVICE_STAT :设备⣬ᘷ确䇚用ᇺ存器

EiW�̚� 5HVHUYHG ᵚᆹ㻵。䈫ਆ٬࿻㓸䘄എ³0´。
EiW3 PHDVXUH 可⺞䇔设备的动֌⣦ᘱ。٬ሶ㠚动࠷ᦒ。

  0˖ 测量ᆼᡀ̚ла⅑测量

  �˖ 测量̚ᮠᦞޕ߉ᆼᡀ

EiW�̚� 5HVHUYHG ᵚᆹ㻵。䈫ਆ٬࿻㓸䘄എ³0´。
EiW0 RWpBXpGDWH 可⺞䇔ሩ190的ᮠᦞ䇯䰞⣦ᘱ。٬ሶ㠚动࠷ᦒ。

  0˖ ᵚ䇯䰞190的⣦ᘱ

  �˖ ↓൘䇯䰞190的ᮠᦞ

I2C_SET : I2Cѱㄏԙ⸷设ᇐ

EiW�̚3 ᵚᆹ㻵 䈫ਆ٬࿻㓸䘄എ³0´。ޕ߉ᰦ请设Ѫ0。
EiW�̚0 PDVWHUBFRGH>��0@ ,�& +S⁑ᔿ的ѫㄉԓ⸱

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

&75LB0(AS )�K ��K 5/: WHPpBDYHUDJH>��0@ pUHVVBDYHUDJH>��0@ pRZHUBPRGH>��0@ 00K

000 001 010 011 100 101 110 111

VNip � � � � �� 3� ��

000 001 010 011 100 101 110 111

VNip � � � � �� 3� ��

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ ㊱࠼
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

'(9,&(BS7A7 )3K �3K 5/ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ PHDVXUH ˉ ˉ RWpBXpGDWH 00K ˉ

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

,�&BS(7 )�K ��K 5/: ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ PDVWHUBFRGH>��0@ 0�K

000 001 010 011 100 101 110 111

0�K 09K 0AK 0%K 0&K 0'K 0(K 0)K

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器 2SMPB-02E

IIR_CNT : IIR filter┚⌘系数设ᇐ

EiW�̚3 5HVHUYHG ᵚ֯⭘。ޕ߉ᰦ请设Ѫ0。
EiW�̚0 IiOWHU>��0@ ,,5 IiOWHU的㌫ᮠ设ᇊ

((࿻٬Ѫ2ࡍ
䙊䗷䙊ؑሩᵜ地൰䘋㹼ZUiWH䇯䰞ᰦˈ ,,5 IiOWHUሶࡍ࿻ॆ。

RESET : གྷ位控制用ᇺ存器

EiW�̚0 UHVHW>��0@ 䗃³ޕ(�K´ᰦˈሶᢗ㹼䖟Ԧ༽ս。

䗃ަޕᆳ内ᇩᰦˈнՊᴹԫօ৽ᓄ。

⌘� 䖟Ԧ༽սਾ的�0PV内⾱→䙊ؑ。

CHIP_ID : CHIP_ID确䇚用ᇺ存器

EiW�̚0 FKipBiG>��0@ 䈫ਆᵜᇴᆈ器ᰦሶ䘄എ³5&K´。

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

,,5B&17 )�K ��K 5/: ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ IiOWHU>��0@ 00K

000 001 010 011 100 101 110 111

2)) 1   � 1   � 1   � 1   �� 1   3� 1   3� 1   3�

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

5(S(7 (0K �0K ˉ/: UHVHW>��0@ 00K

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

&+,PB,' '�K 5�K 5/ˉ FKipBiG>��0@ 5&K

1/N 

N-1 Z-1 

IN  OUT 
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2SMPB-02E

CTRL_MEAS : 测量ᶗԬ设ᇐ用ᇺ存器

EiW�̚5 WHPpBDYHUDJH>��0@ ⑙度ᮠᦞ的平൷༴⨶⅑ᮠ(VNipн䘋㹼测量。 )

EiW�̚� pUHVVBDYHUDJH>��0@ 压࣋ᮠᦞ的平൷༴⨶⅑ᮠ(VNipн䘋㹼测量。 )

EiW�̚0 pRZHUBPRGH>��0@ 动֌⁑ᔿ的设ᇊ

  00˖ SOHHp⁑ᔿ

  0�, �0˖)RUFHG⁑ᔿ

  ��˖ 1RUPDO⁑ᔿ

DEVICE_STAT :设备⣬ᘷ确䇚用ᇺ存器

EiW�̚� 5HVHUYHG ᵚᆹ㻵。䈫ਆ٬࿻㓸䘄എ³0´。
EiW3 PHDVXUH 可⺞䇔设备的动֌⣦ᘱ。٬ሶ㠚动࠷ᦒ。

  0˖ 测量ᆼᡀ̚ла⅑测量

  �˖ 测量̚ᮠᦞޕ߉ᆼᡀ

EiW�̚� 5HVHUYHG ᵚᆹ㻵。䈫ਆ٬࿻㓸䘄എ³0´。
EiW0 RWpBXpGDWH 可⺞䇔ሩ190的ᮠᦞ䇯䰞⣦ᘱ。٬ሶ㠚动࠷ᦒ。

  0˖ ᵚ䇯䰞190的⣦ᘱ

  �˖ ↓൘䇯䰞190的ᮠᦞ

I2C_SET : I2Cѱㄏԙ⸷设ᇐ

EiW�̚3 ᵚᆹ㻵 䈫ਆ٬࿻㓸䘄എ³0´。ޕ߉ᰦ请设Ѫ0。
EiW�̚0 PDVWHUBFRGH>��0@ ,�& +S⁑ᔿ的ѫㄉԓ⸱

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

&75LB0(AS )�K ��K 5/: WHPpBDYHUDJH>��0@ pUHVVBDYHUDJH>��0@ pRZHUBPRGH>��0@ 00K

000 001 010 011 100 101 110 111

VNip � � � � �� 3� ��

000 001 010 011 100 101 110 111

VNip � � � � �� 3� ��

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ ㊱࠼
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

'(9,&(BS7A7 )3K �3K 5/ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ PHDVXUH ˉ ˉ RWpBXpGDWH 00K ˉ

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

,�&BS(7 )�K ��K 5/: ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ PDVWHUBFRGH>��0@ 0�K

000 001 010 011 100 101 110 111

0�K 09K 0AK 0%K 0&K 0'K 0(K 0)K

2SMPB-02E

IIR_CNT : IIR filter┚⌘系数设ᇐ

EiW�̚3 5HVHUYHG ᵚ֯⭘。ޕ߉ᰦ请设Ѫ0。
EiW�̚0 IiOWHU>��0@ ,,5 IiOWHU的㌫ᮠ设ᇊ

((࿻٬Ѫ2ࡍ
䙊䗷䙊ؑሩᵜ地൰䘋㹼ZUiWH䇯䰞ᰦˈ ,,5 IiOWHUሶࡍ࿻ॆ。

RESET : གྷ位控制用ᇺ存器

EiW�̚0 UHVHW>��0@ 䗃³ޕ(�K´ᰦˈሶᢗ㹼䖟Ԧ༽ս。

䗃ަޕᆳ内ᇩᰦˈнՊᴹԫօ৽ᓄ。

⌘� 䖟Ԧ༽սਾ的�0PV内⾱→䙊ؑ。

CHIP_ID : CHIP_ID确䇚用ᇺ存器

EiW�̚0 FKipBiG>��0@ 䈫ਆᵜᇴᆈ器ᰦሶ䘄എ³5&K´。

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

,,5B&17 )�K ��K 5/: ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ IiOWHU>��0@ 00K

000 001 010 011 100 101 110 111

2)) 1   � 1   � 1   � 1   �� 1   3� 1   3� 1   3�

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

5(S(7 (0K �0K ˉ/: UHVHW>��0@ 00K

ᇺ存器੃〦
地൶

R/W
Data

ٲခࡓ
I2C SPI bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

&+,PB,' '�K 5�K 5/ˉ FKipBiG>��0@ 5&K

1/N 

N-1 Z-1 

IN  OUT 

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器
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2SMPB-02E

I2C অ䇤
(1) I2C Ԅㄏ地൶

,�& Ӿㄉ地൰ྲлᡰ䘠。

ֻྲS'2˙LRZ (0)ᰦˈ

。��:5(0))��ሶӾㄉ地൰的LS%设Ѫ³0´ᰦˈ地൰ሶਈѪ(0K (���0B0000E)� (�0K˖ޕ߉
䈫ਆ˖ሶӾㄉ地൰的LS%设Ѫ³�´ᰦˈ地൰ሶਈѪ(�K (���0B000�E)� (�0K����5'(�))。

(2) I2C Access protocol Examples

(3) I2C write

੟动⣦ᘱਾˈሶਁ䘱'HYiFH AGGUHVV(EiW�̚�)࣐кؑޕ߉ਧ(˙³0´DW EiW0)的ᮠᦞˈ设ѪZUiWH⁑ᔿ。↔ਾˈ൘ਈѪڌ→⣦ᘱࡽˈՊሶޕ߉ս

㖞的ᇴᆈ器地൰和ޕ߉ᮠᦞ(5HJiVWHU AGGUHVV)设Ѫ�ˈᤱ㔝ਁ䘱ᮠᦞ。

(4) I2C read

俆ݸ൘ZUiWH⁑ᔿлˈਁ䘱ᴰࡍ䈫ਆ的5HJiVWHU AGGUHVV。
᧕⵰ˈሶڌ→⣦ᘱ࠷ᦒѪ੟动⣦ᘱˈᡆ޽⅑设Ѫ੟动⣦ᘱਾ࠷ᦒ㠣UHDG⁑ᔿˈ䗃ࠪᴰޕ߉ࡍ的5HJiVWHU AGGUHVV的ᮠᦞ٬。

❦ਾˈ൘1A&.䗃ࡽޕ㠚动〫动㠣5HJiVWHU AGGUHVV��的地൰ˈᒦ䟽༽ᢗ㹼䗃ࠪᮠᦞ٬的动֌。

。´䗮5HJiVWHU AGGUHVV˙³))K´ᰦˈᮠᦞ٬ሶ࿻㓸䗃ࠪ³00Kࡠ
Ӿ³)AK´䈫ਆ3E\WHᮠᦞᰦ的⽪ֻྲлᡰ䘠。 

SDO I2C Slave Address (7 bits) Bit
bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

Add[6] Add[5] Add[4] Add[3] Add[2] Add[1] Add[0] R/W

+iJK(�) 5�K � 5/: 9DOXH � 0 � 0 � � 0 �/0

LRZ(0) �0K � 5/: 9DOXH � � � 0 0 0 0 �/0

Symbol Condition

S7A57 S7A57 FRnGiWiRn

S72P S72P FRnGiWiRn

SA&. AFNnRZOHGJH E\ SODYH

0A&. AFNnRZOHGJH E\ 0DVWHU

01A&. 1RW AFNnRZOHGJH E\ 0DVWHU

7 6 5 4 3 2 1 0
 

7 6 5 4 3 2 1 0
 

唇字φѱㄏĮԄㄏȼȼ㬓字φԄㄏĮѱㄏ

Start Device Address 0 SACK

7 6 5 4 3 2 1 0

Register Address Write Data SACK

Register Address SACK Write Data SACK SACK Stop- - -

- - -

SCL

SDA

7 6 5 4 3 2 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

SACK

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

Read Data of "FBh" MACK Read Data of "FCh" MNACK Stop

Start Device Address 0 Register Address "FAh" SACK

Start Device Address 1 SACK Read Data of "FAh" MACK

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

SCL

SDA

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

SACK

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器 2SMPB-02E

SPI অ䇤
(1) SPI write

。ᮠᦞ֌Ѫа㓴䘋㹼ਁ䘱ޕ߉ᰦˈ൘ሶ&S%设Ѫ³L´的⣦ᘱлሶ5HJiVWHU AGGUHVV(&WO�˙³0´�AGGUHVV)和ޕ߉

(&WO�ؑਧ൘&WO�˙³0´ᰦZUiWHˈ &WO�˙³ˍ´ᰦUHDG)
&S%Ѫ³L´ᰦ可ޕ߉ཊ⅑ˈ &S%ਈѪ³+´ᰦሶ㔃ᶏ䙊ؑ。 (о,�& ZUiWH⴨਼) 

(2) SPI read

䈫ਆᰦˈ俆ݸ൘ሶ&S%设Ѫ³L´的⣦ᘱлਁ䘱5HJiVWHU AGGUHVV(&WO�˙³�´�AGGUHVV)。
᧕⵰ˈᤷᇊ5HJiVWHU AGGUHVV的ᮠᦞ٬ሶ䙊䗷S'2(3�ZiUH⁑ᔿлѪS',)䗃ࠪ。

❦ਾˈ൘&S%ਈѪ³+´ࡽˈሶ㠚动〫动㠣5HJiVWHU AGGUHVV��的地൰ˈᒦ䟽༽ᢗ㹼䗃ࠪᮠᦞ٬的动֌。

(о,�& UHDG⴨਼)
Ӿ³)AK´䈫ਆ�E\WHᮠᦞᰦ的⽪ֻྲлᡰ䘠。 

Start 0 Address (7bit) Write Data (8bit) 0 Address (7bit) Write Data (8bit) Stop

- - - - - - - - - 

- - -

- - - - - - 

CSB

SCK

SDI/O

Start 1 Address“7Ah”(7bit) Read Data of “7Ah” Read Data of “7Bh” Stop

- - - - - - - - - 

CSB

SCK

SDI/O
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2SMPB-02E

I2C অ䇤
(1) I2C Ԅㄏ地൶

,�& Ӿㄉ地൰ྲлᡰ䘠。

ֻྲS'2˙LRZ (0)ᰦˈ

。��:5(0))��ሶӾㄉ地൰的LS%设Ѫ³0´ᰦˈ地൰ሶਈѪ(0K (���0B0000E)� (�0K˖ޕ߉
䈫ਆ˖ሶӾㄉ地൰的LS%设Ѫ³�´ᰦˈ地൰ሶਈѪ(�K (���0B000�E)� (�0K����5'(�))。

(2) I2C Access protocol Examples

(3) I2C write

੟动⣦ᘱਾˈሶਁ䘱'HYiFH AGGUHVV(EiW�̚�)࣐кؑޕ߉ਧ(˙³0´DW EiW0)的ᮠᦞˈ设ѪZUiWH⁑ᔿ。↔ਾˈ൘ਈѪڌ→⣦ᘱࡽˈՊሶޕ߉ս

㖞的ᇴᆈ器地൰和ޕ߉ᮠᦞ(5HJiVWHU AGGUHVV)设Ѫ�ˈᤱ㔝ਁ䘱ᮠᦞ。

(4) I2C read

俆ݸ൘ZUiWH⁑ᔿлˈਁ䘱ᴰࡍ䈫ਆ的5HJiVWHU AGGUHVV。
᧕⵰ˈሶڌ→⣦ᘱ࠷ᦒѪ੟动⣦ᘱˈᡆ޽⅑设Ѫ੟动⣦ᘱਾ࠷ᦒ㠣UHDG⁑ᔿˈ䗃ࠪᴰޕ߉ࡍ的5HJiVWHU AGGUHVV的ᮠᦞ٬。

❦ਾˈ൘1A&.䗃ࡽޕ㠚动〫动㠣5HJiVWHU AGGUHVV��的地൰ˈᒦ䟽༽ᢗ㹼䗃ࠪᮠᦞ٬的动֌。

。´䗮5HJiVWHU AGGUHVV˙³))K´ᰦˈᮠᦞ٬ሶ࿻㓸䗃ࠪ³00Kࡠ
Ӿ³)AK´䈫ਆ3E\WHᮠᦞᰦ的⽪ֻྲлᡰ䘠。 

SDO I2C Slave Address (7 bits) Bit
bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

Add[6] Add[5] Add[4] Add[3] Add[2] Add[1] Add[0] R/W

+iJK(�) 5�K � 5/: 9DOXH � 0 � 0 � � 0 �/0

LRZ(0) �0K � 5/: 9DOXH � � � 0 0 0 0 �/0

Symbol Condition

S7A57 S7A57 FRnGiWiRn

S72P S72P FRnGiWiRn

SA&. AFNnRZOHGJH E\ SODYH

0A&. AFNnRZOHGJH E\ 0DVWHU

01A&. 1RW AFNnRZOHGJH E\ 0DVWHU

7 6 5 4 3 2 1 0
 

7 6 5 4 3 2 1 0
 

唇字φѱㄏĮԄㄏȼȼ㬓字φԄㄏĮѱㄏ

Start Device Address 0 SACK

7 6 5 4 3 2 1 0

Register Address Write Data SACK

Register Address SACK Write Data SACK SACK Stop- - -

- - -

SCL

SDA

7 6 5 4 3 2 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

SACK

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

Read Data of "FBh" MACK Read Data of "FCh" MNACK Stop

Start Device Address 0 Register Address "FAh" SACK

Start Device Address 1 SACK Read Data of "FAh" MACK

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

SCL

SDA

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

SACK

2SMPB-02E

SPI অ䇤
(1) SPI write

。ᮠᦞ֌Ѫа㓴䘋㹼ਁ䘱ޕ߉ᰦˈ൘ሶ&S%设Ѫ³L´的⣦ᘱлሶ5HJiVWHU AGGUHVV(&WO�˙³0´�AGGUHVV)和ޕ߉

(&WO�ؑਧ൘&WO�˙³0´ᰦZUiWHˈ &WO�˙³ˍ´ᰦUHDG)
&S%Ѫ³L´ᰦ可ޕ߉ཊ⅑ˈ &S%ਈѪ³+´ᰦሶ㔃ᶏ䙊ؑ。 (о,�& ZUiWH⴨਼) 

(2) SPI read

䈫ਆᰦˈ俆ݸ൘ሶ&S%设Ѫ³L´的⣦ᘱлਁ䘱5HJiVWHU AGGUHVV(&WO�˙³�´�AGGUHVV)。
᧕⵰ˈᤷᇊ5HJiVWHU AGGUHVV的ᮠᦞ٬ሶ䙊䗷S'2(3�ZiUH⁑ᔿлѪS',)䗃ࠪ。

❦ਾˈ൘&S%ਈѪ³+´ࡽˈሶ㠚动〫动㠣5HJiVWHU AGGUHVV��的地൰ˈᒦ䟽༽ᢗ㹼䗃ࠪᮠᦞ٬的动֌。

(о,�& UHDG⴨਼)
Ӿ³)AK´䈫ਆ�E\WHᮠᦞᰦ的⽪ֻྲлᡰ䘠。 

Start 0 Address (7bit) Write Data (8bit) 0 Address (7bit) Write Data (8bit) Stop

- - - - - - - - - 

- - -

- - - - - - 

CSB

SCK

SDI/O

Start 1 Address“7Ah”(7bit) Read Data of “7Ah” Read Data of “7Bh” Stop

- - - - - - - - - 

CSB

SCK

SDI/O

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器
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2SMPB-02E

接口⢯ᙝ
(1) I2C ᰬ䰪

᭟ᤱ�00NEpV(DW SWDnGDUG 0RGH)ǃ �00NEpV(DW )DVW 0RGH)ǃ 3��0EpV(DW +iJK SpHHG 0RGH)。
,�&ᰦ䰤֯⭘ԕл㕙߉。

S˂) 0RGH   SWDnGDUG DnG )DVW 0RGH
&E   EXV FDpDFiWDnFH Rn S', OinH
+S 0RGH   +iJK SpHHG 0RGH

ަᆳᡰᴹ਽〠൷ᤷ,�&㿴Ṭ���(�000ᒤ�ᴸ)。

ަᆳᵚ⌘᰾的亩ⴞ৺ㅖਧ൷ㅖਸ,�&㿴Ṭ。

亯目 符号 ᶗԬ Min. Typ. Max. 单位 备⌞

S',ᮠᦞ
设㖞ᰦ䰤

WS8'A7

S	) 0RGH ��0 ˉ ˉ nV

+S 0RGH 9iR   ���� 9 30 ˉ ˉ nV

+S 0RGH 9iR   ��� 9 55 ˉ ˉ nV

S',ᮠᦞ
ᤱᰦ䰤؍

W+''A7

S	) 0RGH, &E İ �00 p) �0 ˉ ˉ nV

S	) 0RGH, &E İ �00 p) 90 ˉ ˉ nV

+S 0RGH, &E İ �00 p)
9iR   ���� 9 �� ˉ ��5 nV

9iR   ��� 9 �5 ˉ ��0 nV

+S 0RGH, &E İ �00 p)
9iR   ���� 9 �� ˉ �50 nV

9iR   ��� 9 �5 ˉ ��0 nV

S&.ᰦ䫏
LRZ㜹ߢ

WL2: +S 0RGH, &E İ �00 p)
9iR   ���� 9 ��0 ˉ ˉ nV

9iR   ��� 9 ��0 ˉ ˉ nV

tHDSTA

tSUSTA tSUSTO

tr

SDA

SCL

SDA

tBUF
tLOW tf

tHIGHtHDDAT tSUDAT

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器 2SMPB-02E

(2) SPI ᰬ䰪

ᡰᴹᰦ䰤൷䘲⭘ҾSP,的�㓯ᔿ和3㓯ᔿ。

ѪҶᓄሩ高䱫ᣇ⣦ᘱл的ཆ䜘ᒢᢠˈ ᔪ䇞ྲл᫽֌ ˖

·֯⭘�㓯ᔿSP,ᰦˈሩS'2ㄟᆀ䙊䗷电䱫к᣹㠣9iR
·֯⭘3㓯ᔿSP,ᰦˈሩS',ㄟᆀ䙊䗷电䱫к᣹㠣9iR
ֻ)5pXOOXp˙3��Nȍ ˜9iR˙���9

亯目 符号 ᶗԬ Min. Typ. Max. 单位 备⌞

S&.仁⦷ IBVpi ˉ ˉ �0 0+]

S&.㜹ߢLRZᰦ䰤 WBORZBVFN �0 ˉ ˉ nV

S&.㜹ߢ+iJKᰦ䰤 WBKiJKBVFN �0 ˉ ˉ nV

S',设㖞ᰦ䰤 WBVHWXpBVGi �0 ˉ ˉ nV

S',؍ᤱᰦ䰤 WBKROGBVGi �0 ˉ ˉ nV

S'2䗃ࠪᔦ䘏 WBGHOD\BVGR
&E   �5 p), 9iR   ���� 9 Pin ˉ ˉ 30 nV

&E   �5 p), 9iR   ��� 9 Pin ˉ ˉ �0 nV

&S%设㖞ᰦ䰤 WBVHWXpBFVE �0 ˉ ˉ nV

&S%؍ᤱᰦ䰤 WBKROGBFVE �0 ˉ ˉ nV

&S%B+,ᰦ䰤 WBFVEBKi �00 ˉ ˉ nV

t_setup_csb

CSB

SCK

SDI

SDO

t_high_sck t_hold_csbt_low_sck

t_csb_hi

t_setup_sdi t_hold_sdi

t_delay_sdo

Voh_d1orVoh_d2

Vol_d2

MSB
IN

LSB
OUT

LSB
IN
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2SMPB-02E

接口⢯ᙝ
(1) I2C ᰬ䰪

᭟ᤱ�00NEpV(DW SWDnGDUG 0RGH)ǃ �00NEpV(DW )DVW 0RGH)ǃ 3��0EpV(DW +iJK SpHHG 0RGH)。
,�&ᰦ䰤֯⭘ԕл㕙߉。

S˂) 0RGH   SWDnGDUG DnG )DVW 0RGH
&E   EXV FDpDFiWDnFH Rn S', OinH
+S 0RGH   +iJK SpHHG 0RGH

ަᆳᡰᴹ਽〠൷ᤷ,�&㿴Ṭ���(�000ᒤ�ᴸ)。

ަᆳᵚ⌘᰾的亩ⴞ৺ㅖਧ൷ㅖਸ,�&㿴Ṭ。

亯目 符号 ᶗԬ Min. Typ. Max. 单位 备⌞

S',ᮠᦞ
设㖞ᰦ䰤

WS8'A7

S	) 0RGH ��0 ˉ ˉ nV

+S 0RGH 9iR   ���� 9 30 ˉ ˉ nV

+S 0RGH 9iR   ��� 9 55 ˉ ˉ nV

S',ᮠᦞ
ᤱᰦ䰤؍

W+''A7

S	) 0RGH, &E İ �00 p) �0 ˉ ˉ nV

S	) 0RGH, &E İ �00 p) 90 ˉ ˉ nV

+S 0RGH, &E İ �00 p)
9iR   ���� 9 �� ˉ ��5 nV

9iR   ��� 9 �5 ˉ ��0 nV

+S 0RGH, &E İ �00 p)
9iR   ���� 9 �� ˉ �50 nV

9iR   ��� 9 �5 ˉ ��0 nV

S&.ᰦ䫏
LRZ㜹ߢ

WL2: +S 0RGH, &E İ �00 p)
9iR   ���� 9 ��0 ˉ ˉ nV

9iR   ��� 9 ��0 ˉ ˉ nV

tHDSTA

tSUSTA tSUSTO

tr

SDA

SCL

SDA

tBUF
tLOW tf

tHIGHtHDDAT tSUDAT

2SMPB-02E

(2) SPI ᰬ䰪

ᡰᴹᰦ䰤൷䘲⭘ҾSP,的�㓯ᔿ和3㓯ᔿ。

ѪҶᓄሩ高䱫ᣇ⣦ᘱл的ཆ䜘ᒢᢠˈ ᔪ䇞ྲл᫽֌ ˖

·֯⭘�㓯ᔿSP,ᰦˈሩS'2ㄟᆀ䙊䗷电䱫к᣹㠣9iR
·֯⭘3㓯ᔿSP,ᰦˈሩS',ㄟᆀ䙊䗷电䱫к᣹㠣9iR
ֻ)5pXOOXp˙3��Nȍ ˜9iR˙���9

亯目 符号 ᶗԬ Min. Typ. Max. 单位 备⌞

S&.仁⦷ IBVpi ˉ ˉ �0 0+]

S&.㜹ߢLRZᰦ䰤 WBORZBVFN �0 ˉ ˉ nV

S&.㜹ߢ+iJKᰦ䰤 WBKiJKBVFN �0 ˉ ˉ nV

S',设㖞ᰦ䰤 WBVHWXpBVGi �0 ˉ ˉ nV

S',؍ᤱᰦ䰤 WBKROGBVGi �0 ˉ ˉ nV

S'2䗃ࠪᔦ䘏 WBGHOD\BVGR
&E   �5 p), 9iR   ���� 9 Pin ˉ ˉ 30 nV

&E   �5 p), 9iR   ��� 9 Pin ˉ ˉ �0 nV

&S%设㖞ᰦ䰤 WBVHWXpBFVE �0 ˉ ˉ nV

&S%؍ᤱᰦ䰤 WBKROGBFVE �0 ˉ ˉ nV

&S%B+,ᰦ䰤 WBFVEBKi �00 ˉ ˉ nV

t_setup_csb

CSB

SCK

SDI

SDO

t_high_sck t_hold_csbt_low_sck

t_csb_hi

t_setup_sdi t_hold_sdi

t_delay_sdo

Voh_d1orVoh_d2

Vol_d2

MSB
IN

LSB
OUT

LSB
IN

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器
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2SMPB-02E

གྷ位ࣕ㜳
Րᝏ器可֯⭘³䶎਼步༽սㄟᆀ(5S7ㄟᆀ)´༽ս᫽֌。

步僔ྲлᡰ䘠。

ķ ሩ༽սㄟᆀ䗃ޕ+iJK电压(�00XV ı) 
ĸ ࠷ᯝᯭ࣐的电压(䗃ޕLRZ电压)ᒦ等ᖵ�0PV。

གྷ位ᰬᓅ

䙐信的᧞㦆ᶗԬ
൘䙊⭘ᙫ㓯к䘎᧕ᵜՐᝏ器和ަᆳՐᝏ器ˈᒦфԕ�00NEiW/Vԕк的䙊ؑ速度֯⭘ᵜՐᝏ器ᰦˈѪҶ⺞؍っᇊ䙊ؑˈоަᆳՐᝏ器䙊

ؑਾˈ൘оᵜՐᝏ器ؑࡽˈᔪ䇞⮉ࠪ �PVHF ԕк的ᖵ机ᰦ䰤(参➗лമ)。

䘔接示例 䙐信示例

VDD/VDDIO

RST

Logic reset

IO state

resetPOR

disable disableenable enable

10 ms 10 ms100 Ps 0 s Ő

MCU
2SMPB

-02E
Sensor

A
Sensor

B

2SMPB
-02E

Sensor
A

Sensor
B

Sensor
A

time

1 msec Ő

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器 2SMPB-02E

包装Ƚਇ䍝形式

ਇ䍝形式

⌘�压纹带˂卷盘的㿴Ṭㅖਸ-,S & 0�0��3(,(& �0����3)ḷ߶

压㓯ᑜ

〃㊱ 压纹带

᭬㓩数
3,500њ / �卷
�卷 / �内㇡
ᴰཊ �0内㇡ / �ཆ㇡

ভⴎ ⴤᖴ��0PP
ᨈᯯޛ⌋ 参➗л䘠内ᇩ

A A

P2
P2’

P1

G

0.1
2.45

2.95 2.85±0.05

W

E1

E2

F F’

P0
B

B

A-A ᡠ䶘ഴ

B-B ᡠ䶘ഴ

+0.1
0º1.5

º1.05±0.05

(ᆊ″࠯)

(䘑㔏ᆊ)

(∅䳊10Ѡ࠯″)

䇗数标ᘍ(R0.25 ⴪型ᇳ度0.2 高度0.1)

2.35±0.05

1.14±0.05

0.20±0.05

W 8.0η0.03/ι0.1 压纹带ᇭ度

E1 1.75±0.1 䘋㔉ᆄ的ѝᗳ㠣压纹带кㄟ

E2 䘋㔉ᆄ的ѝᗳ㠣压纹带лㄟ(�0��5PPԕк)
F 3.50±0.05 䘋㔉ᆄ的ѝᗳ㠣压纹䜘ѝᗳ(压纹带ᇭ度ᯩੁ)
F’ 3.50±0.05 䘋㔉ᆄ的ѝᗳ㠣压纹䜘ᆄѝᗳ

G 压纹带лㄟо压纹䜘ѻ䰤(0��5PPԕк)
P0 4.0±0.1 䘋㔉ᆄ䰤䐍

P1 4.0±0.1 压纹䰤䐍

P2 2.00±0.05 䘋㔉ᆄ的ѝᗳ㠣压纹䜘ѝᗳ(压纹带ਆࠪᯩੁ)
P2’ 2.00±0.05 䘋㔉ᆄ的ѝᗳ㠣压纹䜘ᆄѝᗳ

ᵚᤷᇊ的䗩䀂5Ѫ0��PP 0A;�。
䘋㔉ᆄ㍟计䰤䐍的ᇩ䇨ᐞѪ�0њ䰤䐍�0��PP。
ᶀ䍘Ѫ导电ᙗ㚊⻣䞨䞟ṁ㜲。
ᵚᤷᇊ的ቪረ公ᐞѪ�0��PP。
ᡰᴹቪረ൷ԕ䘋㔉ᆄ的⁚䖤৺㓥䖤的ѝᗳ㓯Ѫส߶。
ࠩ‭的ࠪ⁑ᯌ度Ѫ0�0,1�。

ቴ䜞(㓾ㄥ䜞)
160mmԛр

1䪾㝐标䇦

Ԭݹ
ཪ䜞(ခㄥ䜞)
400mmԛр

⮏グ䜞
100mmԛр

㾼ⴌ㜬ᑜ

ᕋ出ᯯੇ
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2SMPB-02E

གྷ位ࣕ㜳
Րᝏ器可֯⭘³䶎਼步༽սㄟᆀ(5S7ㄟᆀ)´༽ս᫽֌。

步僔ྲлᡰ䘠。

ķ ሩ༽սㄟᆀ䗃ޕ+iJK电压(�00XV ı) 
ĸ ࠷ᯝᯭ࣐的电压(䗃ޕLRZ电压)ᒦ等ᖵ�0PV。

གྷ位ᰬᓅ

䙐信的᧞㦆ᶗԬ
൘䙊⭘ᙫ㓯к䘎᧕ᵜՐᝏ器和ަᆳՐᝏ器ˈᒦфԕ�00NEiW/Vԕк的䙊ؑ速度֯⭘ᵜՐᝏ器ᰦˈѪҶ⺞؍っᇊ䙊ؑˈоަᆳՐᝏ器䙊

ؑਾˈ൘оᵜՐᝏ器ؑࡽˈᔪ䇞⮉ࠪ �PVHF ԕк的ᖵ机ᰦ䰤(参➗лമ)。

䘔接示例 䙐信示例

VDD/VDDIO

RST

Logic reset

IO state

resetPOR

disable disableenable enable

10 ms 10 ms100 Ps 0 s Ő

MCU
2SMPB

-02E
Sensor

A
Sensor

B

2SMPB
-02E

Sensor
A

Sensor
B

Sensor
A

time

1 msec Ő

2SMPB-02E

包装Ƚਇ䍝形式

ਇ䍝形式

⌘�压纹带˂卷盘的㿴Ṭㅖਸ-,S & 0�0��3(,(& �0����3)ḷ߶

压㓯ᑜ

〃㊱ 压纹带

᭬㓩数
3,500њ / �卷
�卷 / �内㇡
ᴰཊ �0内㇡ / �ཆ㇡

ভⴎ ⴤᖴ��0PP
ᨈᯯޛ⌋ 参➗л䘠内ᇩ

A A

P2
P2’

P1

G

0.1
2.45

2.95 2.85±0.05

W

E1

E2

F F’

P0
B

B

A-A ᡠ䶘ഴ

B-B ᡠ䶘ഴ

+0.1
0º1.5

º1.05±0.05

(ᆊ″࠯)

(䘑㔏ᆊ)

(∅䳊10Ѡ࠯″)

䇗数标ᘍ(R0.25 ⴪型ᇳ度0.2 高度0.1)

2.35±0.05

1.14±0.05

0.20±0.05

W 8.0η0.03/ι0.1 压纹带ᇭ度

E1 1.75±0.1 䘋㔉ᆄ的ѝᗳ㠣压纹带кㄟ

E2 䘋㔉ᆄ的ѝᗳ㠣压纹带лㄟ(�0��5PPԕк)
F 3.50±0.05 䘋㔉ᆄ的ѝᗳ㠣压纹䜘ѝᗳ(压纹带ᇭ度ᯩੁ)
F’ 3.50±0.05 䘋㔉ᆄ的ѝᗳ㠣压纹䜘ᆄѝᗳ

G 压纹带лㄟо压纹䜘ѻ䰤(0��5PPԕк)
P0 4.0±0.1 䘋㔉ᆄ䰤䐍

P1 4.0±0.1 压纹䰤䐍

P2 2.00±0.05 䘋㔉ᆄ的ѝᗳ㠣压纹䜘ѝᗳ(压纹带ਆࠪᯩੁ)
P2’ 2.00±0.05 䘋㔉ᆄ的ѝᗳ㠣压纹䜘ᆄѝᗳ

ᵚᤷᇊ的䗩䀂5Ѫ0��PP 0A;�。
䘋㔉ᆄ㍟计䰤䐍的ᇩ䇨ᐞѪ�0њ䰤䐍�0��PP。
ᶀ䍘Ѫ导电ᙗ㚊⻣䞨䞟ṁ㜲。
ᵚᤷᇊ的ቪረ公ᐞѪ�0��PP。
ᡰᴹቪረ൷ԕ䘋㔉ᆄ的⁚䖤৺㓥䖤的ѝᗳ㓯Ѫส߶。
ࠩ‭的ࠪ⁑ᯌ度Ѫ0�0,1�。

ቴ䜞(㓾ㄥ䜞)
160mmԛр

1䪾㝐标䇦

Ԭݹ
ཪ䜞(ခㄥ䜞)
400mmԛр

⮏グ䜞
100mmԛр

㾼ⴌ㜬ᑜ

ᕋ出ᯯੇ

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器
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2SMPB-02E

ভⴎ

单Ѡ装

ভⴎ⴪ᖺѰ180mmθ
㿺Ṳ符合JIS C 0806-3 标߼

ᕋ出ᯯੇ

压㓯ᑜভⴎ用标ㆴ

䬓㇊㻁

压㓯ᑜভⴎ用标ㆴ

䬓㇊㻁

ভⴎ

压㓯ᑜভⴎ用标ㆴ

ሼ䍪ᴿ标ㆴ的ভⴎ᭴ޛ䬓㇊㻁中Ⱦ
(1Ѡ䬓㇊㻁中ਠਥ᭴1ޛѠভⴎȾ)
在䬓㇊㻁р㋎䍪压㓯ᑜভⴎ用标ㆴȾ

фভⴎҁ䰪的ࡤᬜ(ഖ䘆输ㅿ㙂ӝ⭕)ᡶሲ㠪的标ㆴ㝅⊗ਥᰖ㿼Ⱦ
(у应ᖧଃ标ㆴрᶗ形⸷的䈱਌Ⱦ)
在䬓㇊㻁中ੂᰬሷޛ⹻㜬ᒬ䘑㺂ሷ口Ⱦ
(у䘑㺂㝧气ᇼሷθӻ✣ሷ口Ⱦ)

ሷ口੄᭴ޛ内㇧䘑㺂存᭴Ⱦ
(1Ѡ内㇧中ਠਥ᭴1ޛѠভⴎȾ)
ሼ䬓㇊㻁的ሷ口䜞਀4 Ѡ䀈᤿下ഴ䘑㺂ᣎਖθሼᣎਖ䜞ᵓ下䘑㺂᭬㓩Ⱦ

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器 2SMPB-02E

᧞㦆ഔ流❀接ᶗԬ

(�) ᆹ㻵ᯩ⌅˖オ气എ⍱✺᧕
�

(�) ᆹ㻵ᰦ的⑙度ᶑԦ˖ᴰ高��0ć
� ᰦ�0。ԕ内


�� എ⍱✺᧕⅑ᮠᓄ൘�⅑ԕл。䟷⭘བྷ气ᔰ᭮型ሱ㻵ˈഐ↔н可␵⍇ࣙ✺ࡲ。

�� ሱ㻵表面测量⑙度。

᧞㦆❀接ᯯ⌋
请设ᇊ⑙度ᶑԦˈ⺞؍എ⍱✺᧕的⑙度ᴢ㓯ྲл表ᡰ⽪。↔ཆˈ请⺞䇔ᇎ䱵⑙度ྲ表ᡰ⽪。

亯目 人✣(T1ЊT2, t1) ❀接(T3, t2) ጦٲ(T4)

ᶑԦ
�50ć̚�00ć
�0。̚��0。

˚���ć
�0。̚�50。

��0ć
�0。̚�0。

t2
Soldering

t1
Preheating 

T4

T3

T2

T1

Time (s) 

T
em

pe
ra

tu
re

 (
đ

)
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2SMPB-02E

ভⴎ

单Ѡ装

ভⴎ⴪ᖺѰ180mmθ
㿺Ṳ符合JIS C 0806-3 标߼

ᕋ出ᯯੇ

压㓯ᑜভⴎ用标ㆴ

䬓㇊㻁

压㓯ᑜভⴎ用标ㆴ

䬓㇊㻁

ভⴎ

压㓯ᑜভⴎ用标ㆴ

ሼ䍪ᴿ标ㆴ的ভⴎ᭴ޛ䬓㇊㻁中Ⱦ
(1Ѡ䬓㇊㻁中ਠਥ᭴1ޛѠভⴎȾ)
在䬓㇊㻁р㋎䍪压㓯ᑜভⴎ用标ㆴȾ

фভⴎҁ䰪的ࡤᬜ(ഖ䘆输ㅿ㙂ӝ⭕)ᡶሲ㠪的标ㆴ㝅⊗ਥᰖ㿼Ⱦ
(у应ᖧଃ标ㆴрᶗ形⸷的䈱਌Ⱦ)
在䬓㇊㻁中ੂᰬሷޛ⹻㜬ᒬ䘑㺂ሷ口Ⱦ
(у䘑㺂㝧气ᇼሷθӻ✣ሷ口Ⱦ)

ሷ口੄᭴ޛ内㇧䘑㺂存᭴Ⱦ
(1Ѡ内㇧中ਠਥ᭴1ޛѠভⴎȾ)
ሼ䬓㇊㻁的ሷ口䜞਀4 Ѡ䀈᤿下ഴ䘑㺂ᣎਖθሼᣎਖ䜞ᵓ下䘑㺂᭬㓩Ⱦ

2SMPB-02E

᧞㦆ഔ流❀接ᶗԬ

(�) ᆹ㻵ᯩ⌅˖オ气എ⍱✺᧕
�

(�) ᆹ㻵ᰦ的⑙度ᶑԦ˖ᴰ高��0ć
� ᰦ�0。ԕ内


�� എ⍱✺᧕⅑ᮠᓄ൘�⅑ԕл。䟷⭘བྷ气ᔰ᭮型ሱ㻵ˈഐ↔н可␵⍇ࣙ✺ࡲ。

�� ሱ㻵表面测量⑙度。

᧞㦆❀接ᯯ⌋
请设ᇊ⑙度ᶑԦˈ⺞؍എ⍱✺᧕的⑙度ᴢ㓯ྲл表ᡰ⽪。↔ཆˈ请⺞䇔ᇎ䱵⑙度ྲ表ᡰ⽪。

亯目 人✣(T1ЊT2, t1) ❀接(T3, t2) ጦٲ(T4)

ᶑԦ
�50ć̚�00ć
�0。̚��0。

˚���ć
�0。̚�50。

��0ć
�0。̚�0。

t2
Soldering

t1
Preheating 

T4

T3

T2

T1

Time (s) 

T
em

pe
ra

tu
re

 (
đ

)

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器
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2SMPB-02E

请正确使用

ީ于使用

(�) 可ⴤ᧕⭘Ҿӗ૱的压࣋ӻ䍘ਚᴹオ气。请य֯⭘ਜ਼㞀㲰ᙗ

气փ(ᴹ机ⓦࡲ气փǃӊ⺛䞨㊫气փǃ⺛ॆ≒气փ等)৺≤

。Պ导㠤᭵䳌ࡉӻ䍘ˈ੖࣋ǃᔲ⢙的压࠶

(�) ӗ૱ᒦ䶎䱢┤㔃ᶴ。请य൘可能Պ᧕䀖≤ǃॆᆖ㦟૱ǃⓦ

。⭘ǃ⋩等的൪ᡰѝ֯ࡲ

(3) 请य൘Պ㔃䵢的⧟ຳл֯⭘。↔ཆ 䱴̍⵰൘Րᝏ器㣟⡷к的

。㔃ᰦˈ可能Պ导㠤Րᝏ器䗃ࠪਈ动ᡆ᭵䳌߫࠶≥

(�) ֯⭘ᰦ请⺞֯؍⭘压࣋൘仍ᇊ压࣋㤳ത内。䎵㤳ത֯⭘ᰦ

Պ导㠤ᦏൿ。

(5) 䶉电可能Պ导㠤ᦏൿ ഐ̍↔ᐕ֌台ǃ地板等带电⢙৺֌ъӪ

ઈ请䟷ਆ᧕地等ᆹޘ᧚ᯭ。

(�) 请य൘ᴹབྷ量㫨汽ǃ⚠ቈ等的൪ᡰѝ֯⭘。

(�) 㓴㻵ᵜӗ૱ਾ ഐ̍␵⍇等㘼֯⭘ⓦࡲᰦՊ导㠤᭵䳌 ഐ̍↔请

䚯֯ݽ⭘。

(�) 请᤹➗䘎᧕മ䘎᧕压࣋Րᝏ器的ㄟᆀ。

(9) ֯⭘䎵༠⌒ᰦˈ൘䜘֯࠶⭘ᶑԦлӗ૱可能Պഐޡᥟ㘼ᦏ

ൿ。ᴥ 公ਨᵚ㿴ᇊ䈖㓶的֯⭘ᶑԦ ഐ̍↔нሩ䎵༠⌒֯⭘⧟

ຳ؍ࠪڊ䇱。нᗇн֯⭘ᰦ 请࣑̍ᗵһݸ㚄㌫ᵜ公ਨ䘋㹼⺞

䇔。

(�0)ᵜӗ૱的ⴆᆀ䟷⭘ᕩᙗ㋈㔃ࡲ䘋㹼㋈㔃ˈᦹ㩭等ᛵߥл的

㙀ࠫߢᙗᴤᕪ。ഐ↔ 请̍⌘᜿䚯ݽ䗷度᣹ըᡆᯭ࣐ᢝᴢᯩੁ

的ᓄ࣋。ᢗ㹼䘄ᐕ等䶎ᑨ㿴֌ъᰦˈ请यሩⴆ䜘ᯭ࣐䍏䖭。

(��)✺᧕нᖃᰦ可能Պ导㠤ਁ✝৺䎧⚛ˈഐ↔൘ㅜ'����亥³᧞
㦆ഔ流❀接ᶗԬ´㤳തԕཆ䘋㹼ᆹ㻵ᰦˈ请һݸ䘋㹼⺞䇔。

(��)ᵜӗ૱傡动ᰦˈઘ䗩电路ǃᆹ㻵ส板可能Պਁ✝ˈᮜ请⌘

᜿。

(�3)请य࠶䀓ᵜӗ૱。

(��)ᵜӗ૱Ѫ㋮ᇶ䴦Ԧˈ请䉘᝾֯⭘。

(�5)↔ཆˈ൘ᵜ㿴ṬҖᵚ䇠䘠的ᶑԦл֯⭘ᰦˈ请䍥公ਨ䘋㹼

һݸ⺞䇔ਾ֯޽⭘。

ީ于䘆输Ƚ保㇗

(�) 请य൘ᆈ൘Պሩӗ૱ӗ生䍏面ᖡ૽的㞀㲰ᙗ气փ(ᴹ机ⓦࡲ

气փǃӊ⺛䞨㊫气փǃ⺛ॆ≒气փ等)的൪ᡰѝ䘋㹼؍㇑。

(�) ӗ૱ᒦ䶎䱢┤㔃ᶴˈഐ↔请य൘可能Պ᧕䀖≤等⢙䍘的൪

ᡰѝ䘋㹼؍㇑。

(3) ⬖ᾎ㓨板ཆ㇡൘؍㇑的䗷〻ѝ Պ̍ഐ؍㇑൪ᡰ的⒯度ǃཆ㇡

ਐ压等㘼ਈ䖟 ഐ̍↔ᔪ䇞䚥ᆸݸ䘋ࠪݸ৏ࡉ。↔ཆ 请̍य䟷

⭘ᣋᣅ等㋇᳤的䍗⢙༴⨶ᯩᔿ。

(�) ⾱→൘ᴹ䱣ݹⴤሴᡆ㍛ཆ㓯➗ሴ的൪ᡰѝ䘋㹼؍㇑。੖ࡉ

Պ导㠤ᦏൿ。

(5) 请൘⑙度ǃ⒯度䘲ᖃ的㤳ത内䘋㹼؍㇑。

⑙度˖�0̚30ćǃ⒯度˖30̚�0�5+
⌘�൘ᵜ公ਨ᧘㦀ԕཆ的ᶑԦл؍ᆈᰦˈ请䍥公ਨ൘ሩᇎ䱵؍ᆈ⧟ຳ䘋㹼䇴

ՠਾࠪڊ判ᯝ。

(�) ㄟᆀ䜘䟷⭘电䭰༴⨶ 可̍能Պഐ؍㇑⣦ᘱ㘼ਈ㢢。ӔԈਾ的

ਈ㢢н኎Ҿ؞؍㤳തˈഐ↔请࠶ݵ⌘᜿؍㇑ᯩ⌅。

(�) 请य൘ᴹབྷ量㫨汽ǃ⚠ቈ等的൪ᡰѝ䘋㹼؍㇑。

ީ于对䰤从的༺⨼

(�) ӔԈਾˈ൘䍥ᐕল的᭦䍗检ḕѝਁ⧠Ҷн┑䏣ᵜ㿴Ṭ的䰞

仈ᡆ䰞仈৏ഐ൘Ҿᵜ公ਨᰦ ሶ̍ݽ䍩ᨀ׋ᴯԓ૱。↔ᰦ 判̍

ᯝѪнਸṬ૱的㣟⡷等䴰䘰䘈㔉ᵜ公ਨ。

(�) ൘䍥公ਨ的᭦䍗检ḕਾਁ生䰞仈ᰦˈ可൘ৼᯩॿ୶的ส⹰

кߣᇊሩ䈕㣟⡷等的༴㖞。↔ཆ 傼̍᭦нਸṬ的㣟⡷৏ࡉк

䴰൘㠚᭦䍗日䎧的��ཙ内⌘᰾䰞仈内ᇩਾ䘰䘈㔉ᵜ公ਨ。

使用⌞ᝅӁ亯

2SMPB-02E MEMS绝对压力传感器 2SMPB-02E

使用ᶗԬ

(�) ᵜ亩ѝ的⭘䈝ᇊѹྲлᡰ䘠。

�) ³֯⭘ᶑԦ等 ´ ˖ ᵜ㿴ṬҖǃ ֯⭘䈤᰾Җǃ 手޼等ѝ䇠䖭

的ᵜӗ૱的֯⭘ᶑԦǃ 仍ᇊ٬ǃ ᙗ能ǃ 䘀㹼⧟ຳǃ ֯⭘

ᯩ⌅ǃ ֯⭘⌘᜿һ亩ǃ ⾱→һ亩等

�) ³⭘ᡧ⭘䙄´˖⭘ᡧ֯⭘ᵜӗ૱的ᯩ⌅ˈवᤜⴤ᧕֯⭘ᡆሶ

ᵜӗ૱㻵ޕ⭘ᡧࡦ䙐的䴦Ԧǃ ঠࡧ电路板ǃ 机Ỡǃ 设备

ᡆ㌫㔏等。

3)³䘲⭘ᙗ等´ ˖ ³⭘ᡧ⭘䙄´ѝᵜӗ૱的(D)动֌ǃ (E)нץ⣟ㅜ

йᯩ⸕䇶ӗᵳǃ (F)䚥ᆸ⌅ᖻԕ৺(G)䚥ᆸ਴⿽ḷ߶

(�) 䇠䖭内ᇩ的⌘᜿һ亩

ˈҾᵜ㿴ṬҖѝ的内ᇩޣ 请⌘᜿ԕлࠐ⛩。

�) 仍ᇊ٬和ᙗ能٬ᱟ൘਴ᶑԦл䘋㹼অ⤜䈅傼ਾ㧧ਆ的٬ˈ

ᒦн؍䇱൘༽ਸᶑԦл可਼ᰦ㧧ਆ਴仍ᇊ٬和ᙗ能٬。

�) 参㘳ᮠᦞӵ׋参㘳ˈᒦн؍䇱൘䈕㤳ത内࿻㓸↓ᑨ䘀㹼。

3) ֯⭘ᇎֻӵ׋参㘳ˈ ᵜ公ਨн؍䇱³䘲⭘ᙗ等´。
�) ᵜ公ਨ可能Պഐӗ૱᭩㢟ǃᵜ公ਨ的৏ഐ等㘼ѝ→ᵜӗ૱

的生ӗᡆਈᴤᵜӗ૱的㿴Ṭ。

(3) ֯⭘ᰦˈ请⌘᜿ԕлࠐ⛩。

�) ֯⭘ᰦ请ㅖਸ仍ᇊ٬ǃ ᙗ能ԕ৺³֯⭘ᶑԦ等´。
�) 请⭘ᡧ㠚㹼⺞䇔³䘲⭘ᙗ等´ˈ 判ᯝᱟ੖可֯⭘ᵜӗ૱。

ᵜ公ਨሩ³䘲⭘ᙗ等´н֌ԫօ؍䇱。

3) ⭘ᡧሶᵜӗ૱⭘Ҿᮤњ㌫㔏ᰦˈ 请࣑ᗵһݸ㠚㹼⺞䇔䝽

电ǃ 设㖞ᱟ੖ᚠᖃ。

�) ֯⭘ᵜӗ૱ᰦˈ请⌘᜿ԕл਴һ亩。 (i)֯⭘ᵜӗ૱ᰦˈᓄ

൘仍ᇊ٬和ᙗ能ᯩ面⮉ᴹ։量ˈ (ii)䟷⭘߇։设计等ᆹޘ

设计ˈণ֯ᵜӗ૱ਁ生᭵䳌ˈ可ሶ³⭘ᡧ⭘䙄´䙐ᡀ的ড䲙

降㠣ᴰվ〻度ˈ (iii)ሩᮤњ㌫㔏䟷ਆᆹޘ᧚ᯭˈԕ֯ੁׯ

⭘㘵੺⸕ড䲙ˈ (iY)ᇊᵏ㔤ᣔᵜӗ૱৺³⭘ᡧ⭘䙄´。
5) ᵜӗ૱ᱟ֌ѪаⅮ面ੁа㡜ᐕъӗ૱的䙊⭘ӗ૱设计ᒦࡦ

䙐㘼ᡀ。 նᱟˈ н可⭘Ҿԕл⭘䙄。 ྲ᷌⭘ᡧሶᵜӗ૱

⭘Ҿԕл⭘䙄ˈ 。䇱؍ᵜ公ਨнሩᵜӗ૱֌ԫօࡉ

(D) 䴰高ᆹޘᙗ的⭘䙄(ֻ˖Ṩ能᧗ࡦ设备ǃ⟳✗设备ǃ

航オ航ཙ设备ǃ䫱路设备ǃ䎧䟽设备ǃၡҀ设备ǃ

५⯇设备ǃᆹޘ㻵㖞ԕ৺ަԆড৺生ભǃڕᓧ⭘䙄)
(E) 䴰高可䶐ᙗ的⭘䙄(ֻ˖➔气ǃ㠚ᶕ≤ǃ电׋࣋ᓄ㌫

㔏ǃ��ሿᰦᤱ㔝䘀㹼的㌫㔏ԕ৺᭟Ԉ㌫㔏等⎹৺ᵳ

࡙ǃ䍒ӗ的⭘䙄等)
(F) ⭘ҾѕṬᶑԦᡆ⧟ຳл(ֻ˖䴰设㖞൘室ཆ的设备ǃ

Պਇॆᆖ⊑ḃ的设备ǃՊਇ电⻱⌒ᒢᢠ的设备ǃՊ

ਇᥟ动ǃࠫߢᖡ૽的䮯ᰦ䰤䘎㔝䘀㹼的设备等)
(G) ൘ᵜ㿴ṬҖѝᵚ䇠䖭的ᶑԦᡆ⧟ຳл֯⭘

�) 䲔к䘠(D)̚(G)䇠䘠的内ᇩཆˈ ᵜӗ૱ҏн可⭘Ҿ汽车(ਜ਼
є䖞车。 л਼)。 请य㻵ޕ汽车䘋㹼֯⭘。 汽ޕҾ可㻵ޣ

车的ӗ૱ˈ 请૘䈒ᵜ公ਨ䬰୞䍏䍓Ӫ。

�) 请यሶᵜӗ૱ԕ⺞؍ᆹޘѪⴞ的ˈⴤ᧕ᡆ䰤᧕⭘ҾӪփ检

测。ሩҾк䘠⭘䙄ˈ请֯⭘ᵜ公ਨՐᝏ器ṧᵜк࠺䖭的ᆹ

。Րᝏ器ޘ

(�) ᵜӗ૱的؞؍ᶑԦྲлᡰ䘠。

�) 。ᵏǂѪ䍝Ҡᵜӗ૱ਾ的�ᒤ内؞؍

�) ԕ׋内ᇩǂሩਁ生᭵䳌的ᵜӗ૱ˈ㓿ᵜ公ਨ判ᯝਾᨀ؞؍

лԫаᴽ࣑。

(D)ਁ生᭵䳌的ᵜӗ૱可൘ᵜ公ਨ㔤؞ᴽ࣑㖁⛩ݽ䍩㔤

؞

(E)ݽ䍩ᨀ׋оਁ生᭵䳌的ᵜӗ૱ᮠ量⴨਼的ᴯԓ૱

3) 䶎؞؍㤳തǂྲ᷌ഐԕлԫа৏ഐ䙐ᡀ᭵䳌ˈࡉн൘؞؍

㤳ത内。

(D)⭘Ҿ䶎ᵜӗ૱৏ᵜ⭘䙄的⭘䙄ᰦ

(E)ᵚ᤹³֯⭘ᶑԦ等´䘋㹼֯⭘

(F)᭩䙐ᡆ㔤؞ᵚ㓿ᵜ公ਨ

(G)㕆ޕᡆ֯⭘䶎⭡ᵜ公ਨӪઈ㕆ࡦ的䖟Ԧ〻ᒿ

(H)ഐԕࠪলᰦ的、ᆖᢰᵟ≤平ᰐ⌅预㿱的৏ഐ

(I) 䲔к䘠ԕཆˈഐᵜ公ਨᡆᵜӗ૱ԕཆ的৏ഐ(वᤜ㠚

❦⚮ᇣ等н可ᣇ࣋)
(5) 䍓ԫݽ䲔

ᵜ֯⭘ᶑԦѝ的؞؍ণоᵜӗ૱⴨ޣ的؞؍的ᡰᴹ内ᇩ。 ሩഐ

ᵜ公ਨ䙐ᡀ的ᦏᇣˈ ᵜ公ਨ৺ᵜӗ૱的䬰୞ᓇᾲн䍏䍓。

(�) ࠪਓ㇑⨶

ࠪਓᵜӗ૱ᡆᢰᵟ䍴ᯉᡆੁ䶎ት≁的Ӫઈᨀ׋ᰦˈ ᓄ䚥ᆸ日ᵜ

৺਴ഭᆹ؍ޘ䳌䍨᱃㇑⨶⴨ޣ的⌅ᖻ⌅㿴。

ྲ᷌⭘ᡧ䘍৽к䘠⌅ᖻ⌅㿴ˈ ᵜӗ૱ᡆᢰ׋可能ᰐ⌅ੁަᨀࡉ

ᵟ䍴ᯉ。
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2SMPB-02E

请正确使用

ީ于使用

(�) 可ⴤ᧕⭘Ҿӗ૱的压࣋ӻ䍘ਚᴹオ气。请य֯⭘ਜ਼㞀㲰ᙗ

气փ(ᴹ机ⓦࡲ气փǃӊ⺛䞨㊫气փǃ⺛ॆ≒气փ等)৺≤

。Պ导㠤᭵䳌ࡉӻ䍘ˈ੖࣋ǃᔲ⢙的压࠶

(�) ӗ૱ᒦ䶎䱢┤㔃ᶴ。请य൘可能Պ᧕䀖≤ǃॆᆖ㦟૱ǃⓦ

。⭘ǃ⋩等的൪ᡰѝ֯ࡲ

(3) 请य൘Պ㔃䵢的⧟ຳл֯⭘。↔ཆ 䱴̍⵰൘Րᝏ器㣟⡷к的

。㔃ᰦˈ可能Պ导㠤Րᝏ器䗃ࠪਈ动ᡆ᭵䳌߫࠶≥

(�) ֯⭘ᰦ请⺞֯؍⭘压࣋൘仍ᇊ压࣋㤳ത内。䎵㤳ത֯⭘ᰦ

Պ导㠤ᦏൿ。

(5) 䶉电可能Պ导㠤ᦏൿ ഐ̍↔ᐕ֌台ǃ地板等带电⢙৺֌ъӪ

ઈ请䟷ਆ᧕地等ᆹޘ᧚ᯭ。

(�) 请य൘ᴹབྷ量㫨汽ǃ⚠ቈ等的൪ᡰѝ֯⭘。

(�) 㓴㻵ᵜӗ૱ਾ ഐ̍␵⍇等㘼֯⭘ⓦࡲᰦՊ导㠤᭵䳌 ഐ̍↔请

䚯֯ݽ⭘。

(�) 请᤹➗䘎᧕മ䘎᧕压࣋Րᝏ器的ㄟᆀ。

(9) ֯⭘䎵༠⌒ᰦˈ൘䜘֯࠶⭘ᶑԦлӗ૱可能Պഐޡᥟ㘼ᦏ

ൿ。ᴥ 公ਨᵚ㿴ᇊ䈖㓶的֯⭘ᶑԦ ഐ̍↔нሩ䎵༠⌒֯⭘⧟

ຳ؍ࠪڊ䇱。нᗇн֯⭘ᰦ 请࣑̍ᗵһݸ㚄㌫ᵜ公ਨ䘋㹼⺞

䇔。

(�0)ᵜӗ૱的ⴆᆀ䟷⭘ᕩᙗ㋈㔃ࡲ䘋㹼㋈㔃ˈᦹ㩭等ᛵߥл的

㙀ࠫߢᙗᴤᕪ。ഐ↔ 请̍⌘᜿䚯ݽ䗷度᣹ըᡆᯭ࣐ᢝᴢᯩੁ

的ᓄ࣋。ᢗ㹼䘄ᐕ等䶎ᑨ㿴֌ъᰦˈ请यሩⴆ䜘ᯭ࣐䍏䖭。

(��)✺᧕нᖃᰦ可能Պ导㠤ਁ✝৺䎧⚛ˈഐ↔൘ㅜ'����亥³᧞
㦆ഔ流❀接ᶗԬ´㤳തԕཆ䘋㹼ᆹ㻵ᰦˈ请һݸ䘋㹼⺞䇔。

(��)ᵜӗ૱傡动ᰦˈઘ䗩电路ǃᆹ㻵ส板可能Պਁ✝ˈᮜ请⌘

᜿。

(�3)请य࠶䀓ᵜӗ૱。

(��)ᵜӗ૱Ѫ㋮ᇶ䴦Ԧˈ请䉘᝾֯⭘。

(�5)↔ཆˈ൘ᵜ㿴ṬҖᵚ䇠䘠的ᶑԦл֯⭘ᰦˈ请䍥公ਨ䘋㹼

һݸ⺞䇔ਾ֯޽⭘。

ީ于䘆输Ƚ保㇗

(�) 请य൘ᆈ൘Պሩӗ૱ӗ生䍏面ᖡ૽的㞀㲰ᙗ气փ(ᴹ机ⓦࡲ

气փǃӊ⺛䞨㊫气փǃ⺛ॆ≒气փ等)的൪ᡰѝ䘋㹼؍㇑。

(�) ӗ૱ᒦ䶎䱢┤㔃ᶴˈഐ↔请य൘可能Պ᧕䀖≤等⢙䍘的൪

ᡰѝ䘋㹼؍㇑。

(3) ⬖ᾎ㓨板ཆ㇡൘؍㇑的䗷〻ѝ Պ̍ഐ؍㇑൪ᡰ的⒯度ǃཆ㇡

ਐ压等㘼ਈ䖟 ഐ̍↔ᔪ䇞䚥ᆸݸ䘋ࠪݸ৏ࡉ。↔ཆ 请̍य䟷

⭘ᣋᣅ等㋇᳤的䍗⢙༴⨶ᯩᔿ。

(�) ⾱→൘ᴹ䱣ݹⴤሴᡆ㍛ཆ㓯➗ሴ的൪ᡰѝ䘋㹼؍㇑。੖ࡉ

Պ导㠤ᦏൿ。

(5) 请൘⑙度ǃ⒯度䘲ᖃ的㤳ത内䘋㹼؍㇑。

⑙度˖�0̚30ćǃ⒯度˖30̚�0�5+
⌘�൘ᵜ公ਨ᧘㦀ԕཆ的ᶑԦл؍ᆈᰦˈ请䍥公ਨ൘ሩᇎ䱵؍ᆈ⧟ຳ䘋㹼䇴

ՠਾࠪڊ判ᯝ。

(�) ㄟᆀ䜘䟷⭘电䭰༴⨶ 可̍能Պഐ؍㇑⣦ᘱ㘼ਈ㢢。ӔԈਾ的

ਈ㢢н኎Ҿ؞؍㤳തˈഐ↔请࠶ݵ⌘᜿؍㇑ᯩ⌅。

(�) 请य൘ᴹབྷ量㫨汽ǃ⚠ቈ等的൪ᡰѝ䘋㹼؍㇑。

ީ于对䰤从的༺⨼

(�) ӔԈਾˈ൘䍥ᐕল的᭦䍗检ḕѝਁ⧠Ҷн┑䏣ᵜ㿴Ṭ的䰞

仈ᡆ䰞仈৏ഐ൘Ҿᵜ公ਨᰦ ሶ̍ݽ䍩ᨀ׋ᴯԓ૱。↔ᰦ 判̍

ᯝѪнਸṬ૱的㣟⡷等䴰䘰䘈㔉ᵜ公ਨ。

(�) ൘䍥公ਨ的᭦䍗检ḕਾਁ生䰞仈ᰦˈ可൘ৼᯩॿ୶的ส⹰

кߣᇊሩ䈕㣟⡷等的༴㖞。↔ཆ 傼̍᭦нਸṬ的㣟⡷৏ࡉк

䴰൘㠚᭦䍗日䎧的��ཙ内⌘᰾䰞仈内ᇩਾ䘰䘈㔉ᵜ公ਨ。

使用⌞ᝅӁ亯

2SMPB-02E

使用ᶗԬ

(�) ᵜ亩ѝ的⭘䈝ᇊѹྲлᡰ䘠。

�) ³֯⭘ᶑԦ等 ´ ˖ ᵜ㿴ṬҖǃ ֯⭘䈤᰾Җǃ 手޼等ѝ䇠䖭

的ᵜӗ૱的֯⭘ᶑԦǃ 仍ᇊ٬ǃ ᙗ能ǃ 䘀㹼⧟ຳǃ ֯⭘

ᯩ⌅ǃ ֯⭘⌘᜿һ亩ǃ ⾱→һ亩等

�) ³⭘ᡧ⭘䙄´˖⭘ᡧ֯⭘ᵜӗ૱的ᯩ⌅ˈवᤜⴤ᧕֯⭘ᡆሶ

ᵜӗ૱㻵ޕ⭘ᡧࡦ䙐的䴦Ԧǃ ঠࡧ电路板ǃ 机Ỡǃ 设备

ᡆ㌫㔏等。

3)³䘲⭘ᙗ等´ ˖ ³⭘ᡧ⭘䙄´ѝᵜӗ૱的(D)动֌ǃ (E)нץ⣟ㅜ

йᯩ⸕䇶ӗᵳǃ (F)䚥ᆸ⌅ᖻԕ৺(G)䚥ᆸ਴⿽ḷ߶

(�) 䇠䖭内ᇩ的⌘᜿һ亩

ˈҾᵜ㿴ṬҖѝ的内ᇩޣ 请⌘᜿ԕлࠐ⛩。

�) 仍ᇊ٬和ᙗ能٬ᱟ൘਴ᶑԦл䘋㹼অ⤜䈅傼ਾ㧧ਆ的٬ˈ

ᒦн؍䇱൘༽ਸᶑԦл可਼ᰦ㧧ਆ਴仍ᇊ٬和ᙗ能٬。

�) 参㘳ᮠᦞӵ׋参㘳ˈᒦн؍䇱൘䈕㤳ത内࿻㓸↓ᑨ䘀㹼。

3) ֯⭘ᇎֻӵ׋参㘳ˈ ᵜ公ਨн؍䇱³䘲⭘ᙗ等´。
�) ᵜ公ਨ可能Պഐӗ૱᭩㢟ǃᵜ公ਨ的৏ഐ等㘼ѝ→ᵜӗ૱

的生ӗᡆਈᴤᵜӗ૱的㿴Ṭ。

(3) ֯⭘ᰦˈ请⌘᜿ԕлࠐ⛩。

�) ֯⭘ᰦ请ㅖਸ仍ᇊ٬ǃ ᙗ能ԕ৺³֯⭘ᶑԦ等´。
�) 请⭘ᡧ㠚㹼⺞䇔³䘲⭘ᙗ等´ˈ 判ᯝᱟ੖可֯⭘ᵜӗ૱。

ᵜ公ਨሩ³䘲⭘ᙗ等´н֌ԫօ؍䇱。

3) ⭘ᡧሶᵜӗ૱⭘Ҿᮤњ㌫㔏ᰦˈ 请࣑ᗵһݸ㠚㹼⺞䇔䝽

电ǃ 设㖞ᱟ੖ᚠᖃ。

�) ֯⭘ᵜӗ૱ᰦˈ请⌘᜿ԕл਴һ亩。 (i)֯⭘ᵜӗ૱ᰦˈᓄ

൘仍ᇊ٬和ᙗ能ᯩ面⮉ᴹ։量ˈ (ii)䟷⭘߇։设计等ᆹޘ

设计ˈণ֯ᵜӗ૱ਁ生᭵䳌ˈ可ሶ³⭘ᡧ⭘䙄´䙐ᡀ的ড䲙

降㠣ᴰվ〻度ˈ (iii)ሩᮤњ㌫㔏䟷ਆᆹޘ᧚ᯭˈԕ֯ੁׯ

⭘㘵੺⸕ড䲙ˈ (iY)ᇊᵏ㔤ᣔᵜӗ૱৺³⭘ᡧ⭘䙄´。
5) ᵜӗ૱ᱟ֌ѪаⅮ面ੁа㡜ᐕъӗ૱的䙊⭘ӗ૱设计ᒦࡦ

䙐㘼ᡀ。 նᱟˈ н可⭘Ҿԕл⭘䙄。 ྲ᷌⭘ᡧሶᵜӗ૱

⭘Ҿԕл⭘䙄ˈ 。䇱؍ᵜ公ਨнሩᵜӗ૱֌ԫօࡉ

(D) 䴰高ᆹޘᙗ的⭘䙄(ֻ˖Ṩ能᧗ࡦ设备ǃ⟳✗设备ǃ

航オ航ཙ设备ǃ䫱路设备ǃ䎧䟽设备ǃၡҀ设备ǃ

५⯇设备ǃᆹޘ㻵㖞ԕ৺ަԆড৺生ભǃڕᓧ⭘䙄)
(E) 䴰高可䶐ᙗ的⭘䙄(ֻ˖➔气ǃ㠚ᶕ≤ǃ电׋࣋ᓄ㌫

㔏ǃ��ሿᰦᤱ㔝䘀㹼的㌫㔏ԕ৺᭟Ԉ㌫㔏等⎹৺ᵳ

࡙ǃ䍒ӗ的⭘䙄等)
(F) ⭘ҾѕṬᶑԦᡆ⧟ຳл(ֻ˖䴰设㖞൘室ཆ的设备ǃ

Պਇॆᆖ⊑ḃ的设备ǃՊਇ电⻱⌒ᒢᢠ的设备ǃՊ

ਇᥟ动ǃࠫߢᖡ૽的䮯ᰦ䰤䘎㔝䘀㹼的设备等)
(G) ൘ᵜ㿴ṬҖѝᵚ䇠䖭的ᶑԦᡆ⧟ຳл֯⭘

�) 䲔к䘠(D)̚(G)䇠䘠的内ᇩཆˈ ᵜӗ૱ҏн可⭘Ҿ汽车(ਜ਼
є䖞车。 л਼)。 请य㻵ޕ汽车䘋㹼֯⭘。 汽ޕҾ可㻵ޣ

车的ӗ૱ˈ 请૘䈒ᵜ公ਨ䬰୞䍏䍓Ӫ。

�) 请यሶᵜӗ૱ԕ⺞؍ᆹޘѪⴞ的ˈⴤ᧕ᡆ䰤᧕⭘ҾӪփ检

测。ሩҾк䘠⭘䙄ˈ请֯⭘ᵜ公ਨՐᝏ器ṧᵜк࠺䖭的ᆹ

。Րᝏ器ޘ

(�) ᵜӗ૱的؞؍ᶑԦྲлᡰ䘠。

�) 。ᵏǂѪ䍝Ҡᵜӗ૱ਾ的�ᒤ内؞؍

�) ԕ׋内ᇩǂሩਁ生᭵䳌的ᵜӗ૱ˈ㓿ᵜ公ਨ判ᯝਾᨀ؞؍

лԫаᴽ࣑。

(D)ਁ生᭵䳌的ᵜӗ૱可൘ᵜ公ਨ㔤؞ᴽ࣑㖁⛩ݽ䍩㔤

؞

(E)ݽ䍩ᨀ׋оਁ生᭵䳌的ᵜӗ૱ᮠ量⴨਼的ᴯԓ૱

3) 䶎؞؍㤳തǂྲ᷌ഐԕлԫа৏ഐ䙐ᡀ᭵䳌ˈࡉн൘؞؍

㤳ത内。

(D)⭘Ҿ䶎ᵜӗ૱৏ᵜ⭘䙄的⭘䙄ᰦ

(E)ᵚ᤹³֯⭘ᶑԦ等´䘋㹼֯⭘

(F)᭩䙐ᡆ㔤؞ᵚ㓿ᵜ公ਨ

(G)㕆ޕᡆ֯⭘䶎⭡ᵜ公ਨӪઈ㕆ࡦ的䖟Ԧ〻ᒿ

(H)ഐԕࠪলᰦ的、ᆖᢰᵟ≤平ᰐ⌅预㿱的৏ഐ

(I) 䲔к䘠ԕཆˈഐᵜ公ਨᡆᵜӗ૱ԕཆ的৏ഐ(वᤜ㠚

❦⚮ᇣ等н可ᣇ࣋)
(5) 䍓ԫݽ䲔

ᵜ֯⭘ᶑԦѝ的؞؍ণоᵜӗ૱⴨ޣ的؞؍的ᡰᴹ内ᇩ。 ሩഐ

ᵜ公ਨ䙐ᡀ的ᦏᇣˈ ᵜ公ਨ৺ᵜӗ૱的䬰୞ᓇᾲн䍏䍓。

(�) ࠪਓ㇑⨶

ࠪਓᵜӗ૱ᡆᢰᵟ䍴ᯉᡆੁ䶎ት≁的Ӫઈᨀ׋ᰦˈ ᓄ䚥ᆸ日ᵜ

৺਴ഭᆹ؍ޘ䳌䍨᱃㇑⨶⴨ޣ的⌅ᖻ⌅㿴。

ྲ᷌⭘ᡧ䘍৽к䘠⌅ᖻ⌅㿴ˈ ᵜӗ૱ᡆᢰ׋可能ᰐ⌅ੁަᨀࡉ

ᵟ䍴ᯉ。
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